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Α�ι�τιµε
πελάτη

Σας ευ�αριστ
ύµε για την εµπιστ
σύνη π
υ
δεί&ατε στ
 πρ
ϊ(ν µας και ευ�(µαστε να
µείνετε ικαν
π
ιηµέν
ι.

Τα Leica Z6 APO και Z16 APO της Leica
Microsystems είναι τα µ
ναδικά συστήµατα
5
υµ στην αγ
ρά µε πλήρη απ
�ρωµατική
δι(ρθωση και υπερέ�
υν των άλλων συστη-
µάτων 5
υµ σε (,τι α;
ρά την αντίθεση, την
ευκρίνεια, την πιστ(τητα �ρωµάτων και την
ακρί<εια απεικ(νισης. Τα Leica Z6 APO και
Z16 APO είναι ιδιαιτέρως κατάλληλα για
ελέγ�
υς υψηλής ακρι<είας σε (λα τα
στάδια της παραγωγικής διαδικασίας, µέ�ρι
την ενσωµάτωσή τ
υς σε συστήµατα
µη�ανικής (ρασης καθώς και για επι-
στηµ
νικές και ιατρικές ε;αρµ
γές.

Επιπλέ
ν, µπ
ρείτε να δηµι
υργήσετε
πλήρεις σταθµ
ύς επιµέρ
υς µετρήσεων
και ελέγ�
υ µε <άση τις πρ
σωπικές σας
ανάγκες. Τα νέα συστήµατα 5
υµ διαθέτ
υν
ευρύ ;άσµα πρ
αιρετικών ε&αρτηµάτων για
(λες τις πιθανές εργασίες ε&έτασης, εκ-
παίδευσης και τεκµηρίωσης. Με τις συµ-
<ατές <άσεις, τα συστήµατα ;ωτισµ
ύ, τα
δι
πτρικά συστήµατα παρατήρησης, τ
υς
πρ
σαρµ
γείς <ιντε
κάµερας/;ωτ
-
γρα;ικής µη�ανής, τη µη�αν
κίνητη
εστίαση και τις σύγ�ρ
νες κάµερες CCD
καθώς και π
λλά άλλα, τα Leica Z6 APO και
Z16 APO είναι κατάλληλα για 
πτικ( έλεγ�
,
για εργασίες µέτρησης, τεκµηρίωσης και
ανάλυσης σε εργαστήρι
 ∆ιασ;άλισης
Π
ι(τητας, καθώς και στη <ι
λ
γία, τη γεω-
λ
γία, την ιστ
λ
γία, την εγκληµατ
λ
γία
και την εκπαίδευση.

Κατά την ανάπτυ&η των νέων πρ
ϊ(ντων
µας, δώσαµε µεγάλη <αρύτητα στην απλ(
και αυτ
ν(ητ
 �ειρισµ( τ
υς. Ωστ(σ
,
α;ιερώστε κάπ
ι
 �ρ(ν
 και δια<άστε τ

εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης και τα δεδ
µένα
για την ασ;άλεια λειτ
υργίας, έτσι ώστε να
γνωρίσετε τα πλε
νεκτήµατα και τις
δυνατ(τητες των συστηµάτων 5
υµ Leica
Z6 APO και Z16 APO, και να µπ
ρείτε να τα
�ρησιµ
π
ιείτε κατά τ
ν καλύτερ
 δυνατ(
τρ(π
 και µε ασ;άλεια.

Σε περίπτωση π
υ έ�ετε απ
ρίες, απευθυν-
θείτε στ
ν αντιπρ(σωπ
 της Leica. Τη δι-
εύθυνση τ
υ πλησιέστερ
υ αντιπρ
σώπ
υ
καθώς και π
λύτιµες πληρ
;
ρίες για τα
πρ
ϊ(ντα και τις υπηρεσίες π
υ παρέ�ει η
Leica Microsystems µπ
ρείτε να <ρείτε στην
ιστ
σελίδα µας 
www.leica-microsystems.com.
Είµαστε πρ(θυµ
ι να σας <
ηθήσ
υµε. Για
µας, τ
 ΤΜΗΜΑ ΕKΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ,
έ�ει κε;αλαιώδη σηµασία, τ(σ
 πριν (σ
 και
µετά την αγ
ρά.

Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.
Επι�ειρηµατική µ
νάδα στερε
σκ
πικής
µικρ
σκ
πίας
www.stereomicroscopy.com

http://www.stereomicroscopy.com/


Leica Z6 APO & Z16 APO – Εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης 3

Συν�πτική παρ�υσίαση της συσκευής

Σ�. 1 Βασικά ε&αρτήµατα και �ειριστήρια: αριστερά, σύστηµα 5
υµ Leica Z16 APO µε
εστίαση ακρι<είας και αντικειµενικ( ;ακ(. ∆ε&ιά, σύστηµα 5
υµ Leica Z6 APO µε αντι-
κειµενικ( ;ακ(.

8 Βίδα σύσ;ι&ης για τη ρύθµιση και την
ασ;άλιση τ
υ δια;ράγµατ
ς ίριδας 
(1 = µικρ(τερη διάµετρ
ς, 5 = εντελώς
αν
ικτ()

9 Βίδες Allen για τη στερέωση τ
υ
συστήµατ
ς 5
υµ στ
ν πρ
σαρµ
γέα

10 ∆ακτύλι
ς δια;ράγµατ
ς µε σπείρωµα
για τ
 σ;ί&ιµ
 τ
υ αντικειµενικ
ύ ;ακ
ύ
(σε περίπτωση �ρήσης της εστίασης
ακρι<είας, �αλαρώστε τις 3 <ίδες Allen
στ
 δακτύλι
 δια;ράγµατ
ς και
α;αιρέστε τ
 δακτύλι
 δια;ράγµατ
ς)

9

8

2

7

10

6

44

3

1

7

6

9
8

5

1 Σύστηµα 5
υµ Leica Z16 APO
2 Σύστηµα 5
υµ Leica Z6 APO
3 Εστίαση ακρι<είας

(
 δακτύλι
ς δια;ράγµατ
ς [10] έ�ει
α;αιρεθεί)

4 Αντικειµενικ(ς ;ακ(ς
5 ∆ιακ(πτης για την ενεργ
π
ίηση/απ-

ενεργ
π
ίηση τ
υ αναστ
λέα τ
υ 5
υµ
6 Κ
νδυλωτ(ς δακτύλι
ς για τη ρύθµιση

τ
υ 5
υµ
7 Κλίµακα µε συντελεστές µεγέθυνσης
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1. Καν�νες ασ%αλείας

1.1 Τ� εγ�ειρίδι� �δηγιών �ρήσης

Τα συστήµατα 5
υµ Leica Z6 APO και
Z16 APO συν
δεύ
νται απ( ένα διαδραστι-
κ( δίσκ
 CD-ROM µε (λες τις σ�ετικές 
δη-
γίες �ρήσης στα Γερµανικά, Αγγλικά, Γαλλι-
κά, Ισπανικά, Ιταλικά, Π
ρτ
γαλικά, kλλαν-
δικά, ∆ανικά, Σ
υηδικά, Φινλανδικά και
Ελληνικά. k δίσκ
ς αυτ(ς πρέπει να
;υλάσσεται επιµελώς και να είναι πάντα
διαθέσιµ
ς στ
 �ρήστη. kδηγίες �ρήσης και
ενηµερωµένες εκδ(σεις διατίθενται στην
ιστ
σελίδα µας www.stereomicroscopy.com,
απ( (π
υ µπ
ρείτε και να τις κατε<άσετε
στ
ν υπ
λ
γιστή σας και να τις εκτυπώσετε.

Τ
 εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης π
υ τη συν-

δεύει περιγρά;ει τις ειδικές λειτ
υργίες
των συστηµάτων 5
υµ Leica Z6 APO και
Z16 APO και περιλαµ<άνει σηµαντικές

δηγίες για την ασ;άλεια λειτ
υργίας, τη
συντήρηση και τα πρ
αιρετικά ε&αρτήµατα.
Τα Leica Z6 APO και Z16 APO είναι συστή-
µατα 5
υµ π
υ µπ
ρ
ύν να επεκταθ
ύν
δηµι
υργώντας ένα δ
µ
στ
ι�ειωτ( σύσ-
τηµα και επιτρέπ
ντας ένα σ�εδ(ν απερι(-
ριστ
 ;άσµα συνδυασµών τ
υ ε&
πλισµ
ύ.
Τα µεµ
νωµένα στ
ι�εία, (πως 
ι <άσεις, τα
δι
πτρικά συστήµατα παρατήρησης, τα διά-
;
ρα ε&αρτήµατα κ.
.κ., η συναρµ
λ(γηση
και 
 �ειρισµ(ς τ
υς περιγρά;
νται στ

εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης M2-105-0 των
στερε
σκ
πικών µικρ
σκ
πίων Μ της Leica,
π
υ περιλαµ<άνει περαιτέρω καν(νες
ασ;αλείας σ�ετικά µε τ
 στερε
σκ
πικ(
µικρ
σκ(πι
, τα µη�ανικά και ηλεκτρικά
ε&αρτήµατα καθώς και 
δηγίες για τη
;ρ
ντίδα τ
υ.

Τα πρ
αιρετικά ε&αρτήµατα π
υ ακ
λ
υ-
θ
ύν συν
δεύ
νται απ( ειδικά εγ�ειρίδια

δηγιών �ρήσης:
– Εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης M2-267-1 για

τ
 σύστηµα µη�αν
κίνητης εστίασης.
– Εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης M2-216-2 για

τη <άση µικρ
σκ
πίας διέλευσης HL RC™
της Leica

Πριν απ� την τ�π�θέτηση, τη θέση σε
λειτ�υργία για πρώτη %�ρά και τη �ρήση,
δια0άστε τις πρ�ανα%ερθείσες �δηγίες
�ρήσης. Λά0ετε ιδιαιτέρως υπ�ψη �λ�υς
τ�υς καν�νες ασ%αλείας.
Απ
σκ
πώντας στην καλή διατήρηση της
συσκευής και στη διασ;άλιση της ασ;αλ
ύς
λειτ
υργίας της, 
 �ρήστης πρέπει να λά<ει
υπ(ψη τ
υ τις υπ
δεί&εις και τις πρ
ειδ
-
π
ιητικές παρατηρήσεις π
υ περιλαµ<άνει
τ
 παρ(ν εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης.

1.1.1 Σ�ήµατα
(1.5) kι αριθµ
ί µέσα σε παρενθέσεις εντ(ς
των περιγρα;ών ανα;έρ
νται στα σ�ήµατα
και στις θέσεις στα σ�ήµατα.
Παράδειγµα (1.5): Τ
 σ�ήµα 1 <ρίσκεται στη
σελίδα 3 και στη θέση 5 είναι 
 διακ(πτης
για την ενεργ
π
ίηση/απενεργ
π
ίηση τ
υ
αναστ
λέα τ
υ 5
υµ.



6 Leica Z6 APO & Z16 APO – Καν(νες ασ;αλείας

1.1.2 Σύµ0�λα π�υ �ρησιµ�-
π�ι�ύνται 

Πρ�ειδ�π�ίηση για περι��ή κινδύν�υ
Τ
 σύµ<
λ
 αυτ( επισηµαίνει πληρ
;
ρίες
π
υ πρέπει να δια<αστ
ύν και να τηρ
ύνται.
Τυ�(ν παράλειψη
– µπ
ρεί να θέσει σε κίνδυν
 τ
 πρ
σωπικ(!
– µπ
ρεί να πρ
καλέσει δυσλειτ
υργίες ή

5ηµίες στη συσκευή.

Πρ�ειδ�π�ίηση για επικίνδυνη
ηλεκτρική τάση
Τ
 σύµ<
λ
 αυτ( επισηµαίνει πληρ
;
ρίες
π
υ πρέπει να δια<αστ
ύν και να τηρ
ύνται.
Τυ�(ν παράλειψη 
– µπ
ρεί να θέσει σε κίνδυν
 τ
 πρ
σωπικ(!
– µπ
ρεί να πρ
καλέσει δυσλειτ
υργίες ή

5ηµίες στη συσκευή.

Πρ�ειδ�π�ίηση για π�λύ θερµή
επι%άνεια
Τ
 σύµ<
λ
 αυτ( πρ
ειδ
π
ιεί για π
λύ
θερµά σηµεία π
υ µπ
ρεί να αγγί&ετε, π.�.
λαµπτήρες πυράκτωσης.

Σηµαντικές πληρ�%�ρίες
Τ
 σύµ<
λ
 αυτ( επισηµαίνει πρ(σθετες
πληρ
;
ρίες ή επε&ηγήσεις, 
ι 
π
ίες συµ-
<άλλ
υν στην καταν(ηση των 
δηγιών.

Ενέργεια
� Τ
 σύµ<
λ
 αυτ( παραπέµπει, εντ(ς τ
υ

κειµέν
υ, σε ενέργειες στις 
π
ίες
πρέπει να πρ
<είτε.

Συµπληρωµατικές υπ�δεί�εις
• Τ
 σύµ<
λ
 αυτ( παραπέµπει, εντ(ς τ
υ

κειµέν
υ, σε συµπληρωµατικές πληρ
-
;
ρίες και επε&ηγήσεις.

1.2 Καν�νες ασ%αλείας

Περιγρα%ή

Τα συστήµατα 5
υµ Leica Z6 APO και
Z16 APO είναι 
πτικά συστήµατα µε επι-
λ
γέα µεγέθυνσης 6.3:1 ή 16:1 και µε µια
κεντρική 
πτική διαδρ
µή. sάρη στην παρα-
τήρηση �ωρίς σ;άλµατα παράλλα&ης, είναι
ε;ικτή η λήψη πληρ
;
ριών ακρι<είας. kι
µετρήσεις, 
ι εργασίες πρ
σαρµ
γής και 
ι
α&ι
λ
γήσεις γίν
νται ακρι<έστερες, ενώ
κατά τη ;ωτ
γρά;ηση και την επε&εργασία
εικ(νας λαµ<άν
νται περισσ(τερες και
υψηλής π
ι(τητας πληρ
;
ρίες. Η κατακ(-
ρυ;η 
πτική διαδρ
µή πρ

ρί5εται για ψη-
;ιακές λήψεις µε πρ
γράµµατα π
λλαπλής
εστίασης. kπτικές ε&ετάσεις π(λωσης παρέ-
�
υν αληθινά �ρώµατα π(λωσης και τα γεω-
µετρικά στρώµατα επίπεδων αντικειµένων
υψηλής ανακλαστικ(τητας, (πως πλακιδίων
(wafer) απεικ
νί5
νται �ωρίς παραµ(ρ;ωση
σε περίπτωση �ρήσης 
µ
α&
νικ
ύ
;ωτισµ
ύ.

Τα Leica Z6 APO και Z16 APO διαθέτ
υν
ευρύ ;άσµα δ
µ
στ
ι�ειωτών πρ
αιρετικών
ε&αρτηµάτων, π.�. αντικειµενικ
ύς ;ακ
ύς,
;
ρείς, πρ
σαρµ
γείς <ιντε
κάµερας/
;ωτ
γρα;ικής µη�ανής, <άσεις, δι
πτρικά
συστήµατα παρατήρησης, πρ
σ
;θάλµι
υς
;ακ
ύς και π
λλά άλλα.

Ενδεδειγµένη �ρήση

Με τα συστήµατα 5
υµ Leica Z6 APO και
Z16 APO και τ
υς απ
�ρωµατικ
ύς αντι-
κειµενικ
ύς ;ακ
ύς, είναι δυνατ(ς 
 έλεγ-
�
ς και η τεκµηρίωση 
λ(κληρων αντι-
κειµένων �ωρίς παραµ(ρ;ωση. ∆εδ
µέν
υ
(τι συνιστ
ύν 
πτικ( ε&
πλισµ( υψηλών
επιδ(σεων, ενδείκνυται η �ρήση τ
υς µε
συστήµατα µέτρησης και ελέγ�
υ, µετα&ύ
των 
π
ίων συστήµατα τε�ν
λ
γίας 
πτι-
κ
ύ ελέγ�
υ καθώς επίσης και για πρ
-
ηγµέν
υς εργαστηριακ
ύς σταθµ
ύς
εργασίας.
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Μη ενδεδειγµένη �ρήση

Σε περίπτωση π
υ τα Z6 APO και Z16 APO
και τα ε&αρτήµατά τ
υς �ρησιµ
π
ιηθ
ύν
µε τρ(π
 δια;
ρετικ( απ( αυτ(ν π
υ περι-
γρά;εται στ
 εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης,
µπ
ρεί να πρ
κληθ
ύν τραυµατισµ
ί ή
υλικές 5ηµιές. Επιπλέ
ν, απαγ
ρεύεται
– η �ρήση άλλων ;ις ή καλωδίων.
– η µετατρ
πή ή η απ
συναρµ
λ(γηση

ε&αρτηµάτων, σε περίπτωση π
υ κάτι
τέτ
ι
 δεν περιγρά;εται ρητά στις

δηγίες �ρήσης.

– τ
 άν
ιγµα των ε&αρτηµάτων απ( µη
ε&
υσι
δ
τηµένα άτ
µα.

– η �ρήση των Leica Z6 APO και Z16 APO
για ε&ετάσεις και επεµ<άσεις στ

ανθρώπιν
 µάτι.

kι συσκευές και τα ε&αρτήµατα π
υ περι-
γρά;
νται στ
 εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης
έ�
υν ελεγ�θεί ως πρ
ς την ασ;άλεια ή
πιθαν
ύς κινδύν
υς. Πριν απ( 
π
ιαδήπ
τε
επέµ<αση στη συσκευή, µετατρ
πή ή
λειτ
υργία της µε ε&αρτήµατα άλλ
υ κατα-
σκευαστή π
υ &ε;εύγ
υν απ( τα πλαίσια
τ
υ παρ(ντ
ς εγ�ειριδί
υ, πρέπει να συµ-
<
υλεύεστε τ
ν αρµ(δι
 αντιπρ(σωπ
 της
Leica!
Σε περίπτωση µη ε&
υσι
δ
τηµένης επ-
έµ<ασης στη συσκευή ή µη ενδεδειγµένης
�ρήσης, απ
σ<ήνεται 
π
ιαδήπ
τε α&ίωση
απ
ρρέει απ( την εγγύηση.

Απαιτήσεις απ� τ�ν υπεύθυν�

∆ιασ;αλίστε (τι
– τα Leica Z6 APO και Z16 APO και τα

ε&αρτήµατα �ρησιµ
π
ι
ύνται, συντη-
ρ
ύνται και επισκευά5
νται µ(ν
 απ(
ε&
υσι
δ
τηµέν
 και κατάλληλα εκ-
παιδευµέν
 πρ
σωπικ(.

– τ
 πρ
σωπικ( π
υ �ειρί5εται τ
 µικρ
-
σκ(πι
 έ�ει δια<άσει, καταν
ήσει και
ε;αρµ(5ει (λες τις 
δηγίες �ρήσης π
υ
ανα;έρ
νται στη σελίδα 5 και ιδίως τ
υς
καν(νες ασ;αλείας.

'ώρ�ς �ρήσης

– Τα Leica Z6 APO και Z16 APO επιτρέπεται
να �ρησιµ
π
ι
ύνται µ(ν
 σε κλειστ
ύς
�ώρ
υς �ωρίς σκ(νη, σε θερµ
κρασία
απ( +10 °C έως +40 °C. ∆ιασ;αλίστε (τι 
ι
�ώρ
ι �ρήσης είναι απαλλαγµέν
ι απ(
ατµ
ύς λαδι
ύ ή άλλων �ηµικών και απ(
ε&αιρετικά υψηλή υγρασία.

– Τα ηλεκτρικά ε&αρτήµατα πρέπει να
τ
π
θετ
ύνται σε απ(σταση 10 εκα-
τ
στών τ
υλά�ιστ
ν απ( τ
ν τ
ί�
 και
απ( εύ;λεκτα αντικείµενα.

– Πρέπει να απ
;εύγ
νται 
ι µεγάλες
θερµ
κρασιακές διακυµάνσεις, τ
 άµεσ

ηλιακ( ;ως και τα τραντάγµατα. Ε&αιτίας
αυτών, 
ι µετρήσεις ή 
ι ;ωτ
γρα;ίες
απ( τη µικρ
;ωτ
γρά;ηση µπ
ρεί να
εµπεριέ�
υν σ;άλµατα.

– Τα 
πτικά συστήµατα π
υ �ρησιµ
-
π
ι
ύνται σε 5εστές ή υγρές και 5εστές
κλιµατικές περι
�ές �ρή5
υν ιδιαίτερης
;ρ
ντίδας, πρ
ς απ
;υγή σ�ηµατισµ
ύ
µυκήτων.

Απ�ρριψη

Σε (,τι α;
ρά την απ(ρριψη των ανωτέρω
πρ
ϊ(ντων, πρέπει να ε;αρµ(5
νται 
ι κατά
τ(π
υ ισ�ύ
ντες ν(µ
ι και πρ
διαγρα;ές.

Ν�µικές διατά�εις

Λά<ετε υπ(ψη τις πρ
<λεπ(µενες εκ τ
υ
ν(µ
υ γενικές και κατά τ(π
υς ισ�ύ
υσες
πρ
διαγρα;ές, π
υ α;
ρ
ύν στην πρ(ληψη
ατυ�ηµάτων και την πρ
στασία τ
υ περι-
<άλλ
ντ
ς.

∆ήλωση συµµ�ρ%ωσης ΕΚ

Τα Z6 APO και Z16 APO και τα ε&αρτήµατά
τ
υς έ�
υν κατασκευαστεί µε <άση την
τελευταία λέ&η της τε�ν
λ
γίας και παρ-
έ�
νται µε δήλωση συµµ(ρ;ωσης EΚ.
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Κίνδυν�ι για την υγεία

kι �ώρ
ι εργασίας µε 
πτικά συστήµα-
τα διευκ
λύν
υν και <ελτιών
υν την παρα-
τήρηση, θέτ
υν (µως ιδιαίτερες απαιτήσεις
για την (ραση και τη µυϊκή δύναµη τ
υ
�ρήστη. Ανάλ
γα µε τη �ρ
νική διάρκεια
της απρ(σκ
πτης εργασίας, ενδέ�εται να
αισθανθείτε εν
�λήσεις ασθενωπίας και
εν
�λήσεις µυ
σκελετικής ;ύσεως, έτσι
ώστε η λήψη κατάλληλων µέτρων για την
µείωση της καταπ(νησης να θεωρείται
απαραίτητη:
– <έλτιστη διαµ(ρ;ωση τ
υ �ώρ
υ εργα-

σίας, της ;ύσης των εργασιών και τ
υ
τρ(π
υ εργασίας (συ�νή εναλλαγή
δραστηρι
τήτων).

– λεπτ
µερή καθ
δήγηση τ
υ πρ
σωπικ
ύ
µε ιδιαίτερη έµ;αση σε θέµατα εργ
-
ν
µίας και 
ργάνωσης της εργασίας.

k εργ
ν
µικ(ς σ�εδιασµ(ς των 
πτικών
συστηµάτων Leica απ
σκ
πεί στην ελά�ιστη
δυνατή καταπ(νηση τ
υ �ρήστη. Σε περί-
πτωση π
υ θέλετε να ε&
πλίσετε τ
 σύσ-
τηµά σας µε κάπ
ι
 απ( τα δι
πτρικά συσ-
τήµατα παρατήρησης π
υ διαθέτ
υµε, σας
παρέ�
υµε τα ErgoTubes® και
ErgoModules®, π
υ αντισταθµί5
υν τ
 δια-
;
ρετικ( ύψ
ς των ε&
πλισµών, των πρ
-
αιρετικών ε&αρτηµάτων και την απ(σταση
εργασίας καθώς και τη δια;
ρά ύψ
υς απ(
�ρήστη σε �ρήστη. Σε περίπτωση π
υ αντι-
µετωπί5ετε πρ
<λήµατα µε τη διαρρύθµιση
τ
υ συστήµατ
ς, ρωτήστε τ
 σύµ<
υλ
 της
Leica για τις <έλτιστες εργ
ν
µικές λύσεις
π
υ πρ
σ;έρει η Leica.

Η άµεση επα;ή µε τ
υς πρ
σ
;θάλµι-

υς ;ακ
ύς µπ
ρεί να απ
τελέσει πιθαν(
µέσ
 µετάδ
σης <ακτηριδίων και ι
γενών
µ
λύνσεων στα µάτια. kι �ρήστες πρέπει να
είναι ενηµερωµέν
ι για ενδε�(µεν
 κίνδυν

µ(λυνσης. Η �ρήση ατ
µικών πρ
σ
;θάλ-
µιων ;ακών ή απ
σπώµενων δακτυλίων
περι
ρί5ει τ
ν κίνδυν
.

Επισκευή, εργασίες σέρ0ις

– Η πραγµατ
π
ίηση επισκευαστικών εργα-
σιών επιτρέπεται µ(ν
 απ( εκπαιδευµέ-
ν
υς τε�νικ
ύς σέρ<ις της Leica
Microsystems ή απ( ε&
υσι
δ
τηµέν
 τε-
�νικ( πρ
σωπικ( τ
υ υπεύθυν
υ ;
ρέα.

– Πρέπει να �ρησιµ
π
ι
ύνται µ(ν
 γνήσια
ανταλλακτικά της Leica Microsystems.

– Πρ
τ
ύ αν
ί&ετε ε&αρτήµατα π
υ είναι
υπ( τάση, απ
συνδέστε τ
 καλώδι

τρ
;
δ
σίας.

Αν αγγί�ετε τ� υπ� τάση κύκλωµα,
ενδέ�εται να τραυµατιστείτε.

Μετα%�ρά

– Να �ρησιµ
π
ιείτε την αρ�ική συσ-
κευασία για την απ
στ
λή ή τη µετα;
ρά
των συστηµάτων 5
υµ και των ε&αρτη-
µάτων τ
υς.

– Πρ
κειµέν
υ να απ
;ευ�θ
ύν τυ�(ν
5ηµίες απ( τραντάγµατα, απ
συναρµ
λ
-
γήστε και συσκευάστε &ε�ωριστά (λα τα
κινητά ε&αρτήµατα π
υ µπ
ρ
ύν, σύµ-
;ωνα µε τ
 εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης,
να συναρµ
λ
γηθ
ύν και να απ
συν-
αρµ
λ
γηθ
ύν απ( τ
ν ίδι
 τ
 �ρήστη,
(πως 
 αντικειµενικ(ς ;ακ(ς, 
 πρ
σ-
αρµ
γέας <ιντε
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής
µη�ανής, 
 ;
ρέας, τ
 δι
πτρικ( σύστη-
µα παρατήρησης, 
ι πρ
σ
;θάλµι
ι ;ακ
ί
κ.
.κ.

Τ�π�θέτηση σε πρ�ϊ�ντα άλλ�υ κατα-
σκευαστή

Κατά την τ
π
θέτηση πρ
ϊ(ντων της Leica
σε πρ
ϊ(ντα άλλ
υ κατασκευαστή πρέπει
να λαµ<άνεται υπ(ψη τ
 ε&ής: k κατα-
σκευαστής 
λ(κληρ
υ τ
υ συστήµατ
ς,
δηλ. 
 αντιπρ(σωπ
ς είναι 
 υπεύθυν
ς για
την τήρηση των καν(νων ασ;αλείας, της
ν
µ
θεσίας και των 
δηγιών π
υ είναι σε
ισ�ύ.
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10x
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20x

10 447 206

10 441 597   100mm
10 441 787   150mm
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10 411 589
1,0x
Achromat
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0.32x
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2. Συναρµ�λ�γηση

∆ιάγραµµα 1: Συστήµατα =�υµ, αντικειµενικ�ί %ακ�ί και πρ�αιρετικά
ε�αρτήµατα
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2.1 Συστήµατα �
υµ

Για κάθε σύστηµα �
υµ Leica Z6 APO
και Z16 APO παραγγείλετε έναν αντι-
κειµενικ( )ακ( και, πρ
αιρετικά, την
εστίαση ακρι+είας.

Τα �ασικά ε"αρτήµατα – σύστηµα &�υµ και
αντικειµενικ�ς (ακ�ς – µπ�ρ�ύν να συν-
δυαστ�ύν δ�µ�στ�ι,ειωτά µε διά(�ρ�υς
πρ�σαρµ�γείς, (�ρείς, �άσεις, ρυθµιστές
εστίασης, δι�πτρικά συστήµατα παρα-
τήρησης, συστήµατα (ωτισµ�ύ και πρ�-
αιρετικά ε"αρτήµατα για ψη(ιακή απεικ�-
νιση και να µετατραπ�ύν σε �λ�κληρωµέ-
ν�υς σταθµ�ύς εργασίας. Πρ�αιρετικά
ε"αρτήµατα π�υ ,ρησιµ�π�ι�ύνται και στα
στερε�σκ�πικά µικρ�σκ�πια της σειράς Μ
της Leica, περιγρά(�νται στ� εγ,ειρίδι�
�δηγιών ,ρήσης M2-105-0 των στερε�-
σκ�πικών µικρ�σκ�πίων Μ της Leica.

Για τη συναρµ�λ�γηση ,ρειά&�νται είτε �ι
ενσωµατωµένες �ίδες σύσ(ι"ης ή κλειδί
Allen, τα �π�ία περιλαµ�άν�νται στη συσ-
κευασία.

2.2 Συναρµ
λ(γηση συστήµατ
ς
�
υµ και αντικειµενικ
ύ )ακ
ύ 

• Συνιστ�ύµε να ,ρησιµ�π�ιείτε επίπεδ�υ
πεδί�υ απ�,ρωµατικ�ύς αντικειµενικ�ύς
(ακ�ύς 1×, 2×, 0,8×, 0,5×, για να α"ι�π�ιή-
σετε την υψηλή απ�δ�ση τ�υ απ�,ρωµα-
τικ�ύ συστήµατ�ς &�υµ.

• Στ�υς επίπεδ�υ πεδί�υ απ�,ρωµατικ�ύς
αντικειµενικ�ύς (ακ�ύς µπ�ρ�ύν να
τ�π�θετηθ�ύν πλακίδια λ/4 για τ�ν �µ�-
α"�νικ� (ωτισµ�, � αναλυτής για την
π�λωση ή � δακτυλι�ειδής (ωτισµ�ύς.

• ∆ιατίθενται, επίσης, και �ι α,ρωµατικ�ί
αντικειµενικ�ί (ακ�ί 0,63×, 0,5×, 0,32× της
σειράς M, �ι �π�ί�ι µπ�ρ�ύν να τ�π�θε-
τηθ�ύν µε έναν πρ�σαρµ�γέα στ� &�υµ ή
στην εστίαση ακρι�είας (�λέπε διάγραµµα
συναρµ�λ�γησης σελ. 9).

• Στ�υς α,ρωµατικ�ύς αντικειµενικ�ύς
(ακ�ύς µπ�ρεί να τ�π�θετηθεί � κατα-
κ�ρυ(�ς (ωτισµ�ς ή � πρ�σαρµ�γέας για
κάθετη/πλάγια παρατήρηση.

• Για µεγεθύνσεις σε µικρ�σκ�πική κλίµατα
διατίθενται και �ι αντικειµενικ�ί (ακ�ί
DM και HR, �ι �π�ί�ι µπ�ρ�ύν να τ�π�-
θετηθ�ύν µε έναν πρ�σαρµ�γέα στ� &�υµ
ή στην εστίαση ακρι�είας (�λέπε διά-
γραµµα συναρµ�λ�γησης σελ. 9). Να
,ρησιµ�π�ιείτε πάντ�τε τ�υς αντι-
κειµενικ�ύς (ακ�ύς DM και HR µε
εστίαση ακρι�είας.

Μπ�ρείτε να ,ρησιµ�π�ιήσετε τ�υς αντι-
κειµενικ�ύς (ακ�ύς πάνω στ� σύστηµα
&�υµ Z6 APO ή Z16 APO ή µε την εστίαση
ακρι�είας.

Αντικειµενικ(ς )ακ(ς / σύστηµα �
υµ

� Βιδώστε τ�ν επίπεδ�υ πεδί�υ απ�,ρωµα-
τικ� αντικειµενικ� (ακ� (2.4) αντίθετα
απ� τη (�ρά των δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ
στ� δακτύλι� δια(ράγµατ�ς (2.3).

� Βιδώστε τ�ν α,ρωµατικ� αντικειµενικ�
(ακ� στ� δακτύλι� δια(ράγµατ�ς (2.3)
,ρησιµ�π�ιώντας ένα πρ�σαρµ�γέα.

Αντικειµενικ(ς )ακ(ς / εστίαση ακρι+είας /
σύστηµα �
υµ

� Kαλαρώστε τις 3 �ίδες Allen (2.6) τ�υ
δακτυλί�υ δια(ράγµατ�ς (2.3) και
α(αιρέστε τ� δακτύλι� δια(ράγµατ�ς.

� Στερεώστε την εστίαση ακρι�είας (2.5) µε
τις 3 �ίδες Allen (2.7) στ� σύστηµα &�υµ.

� Βιδώστε τ�ν επίπεδ�υ πεδί�υ απ�,ρωµα-
τικ� αντικειµενικ� (ακ� (1.4) αντίθετα
απ� τη (�ρά των δεικτών τ�υ ρ�λ�γι�ύ
στην εστίαση ακρι�είας (2.5).

� Στερεώστε τ�ν α,ρωµατικ� αντικειµενικ�
(ακ� στην εστίαση ακρι�είας (2.5) ,ρησι-
µ�π�ιώντας ένα πρ�σαρµ�γέα.

� Στερεώστε τ�υς αντικειµενικ�ύς (ακ�ύς
DM και HR (3.2) στην εστίαση ακρι�είας
(3.4) ,ρησιµ�π�ιώντας τ�ν πρ�σαρµ�γέα
(3.3).
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Σ�. 2 Συναρµ
λ(γηση συστήµατ
ς 5
υµ και
αντικειµενικ
ύ ;ακ
ύ:

Αριστερά: σύστηµα 5
υµ Leica Z16 APO,
αντικειµενικ(ς ;ακ(ς τ
π
θετηµέν
ς στ

δακτύλι
 δια;ράγµατ
ς.
∆ε&ιά: σύστηµα 5
υµ Leica Z6 APO µε
εστίαση ακρι<είας (�ωρίς δακτύλι
 δια-
;ράγµατ
ς).

1 Σύστηµα 5
υµ Leica Z16 APO
2 Σύστηµα 5
υµ Leica Z6 APO
3 ∆ακτύλι
ς δια;ράγµατ
ς µε σπείρωµα

για τη στερέωση τ
υ αντικειµενικ
ύ
;ακ
ύ (σε περίπτωση �ρήσης της εστία-
σης ακρι<είας, �αλαρώστε τις 3 <ίδες
Allen στ
 δακτύλι
 δια;ράγµατ
ς και
α;αιρέστε τ
 δακτύλι
 δια;ράγµατ
ς)

4 Αντικειµενικ(ς ;ακ(ς
5 Εστίαση ακρι<είας (
 δακτύλι
ς δια-

;ράγµατ
ς [2.3] έ�ει α;αιρεθεί)
6 kι <ίδες Allen στ
 δακτύλι
 δια;ράγµα-

τ
ς στερεών
υν τ
 δακτύλι
 δια;ράγµα-
τ
ς στ
 σύστηµα 5
υµ (;αίνεται µία απ(
τις 3 <ίδες Allen)

7 kι <ίδες Allen στην εστίαση ακρι<είας
στερεών
υν την εστίαση ακρι<είας στ

σύστηµα 5
υµ (;αίνεται µία απ( τις 
3 <ίδες Allen)

Σ�. 3 Συναρµ
λ(γηση συστήµατ
ς 5
υµ και
µικρ
-αντικειµενικ
ύ ;ακ
ύ:

1 Σύστηµα 5
υµ Leica Z16 APO
2 Μικρ
-αντικειµενικ(ς ;ακ(ς
3 Πρ
σαρµ
γέας για µικρ
-αντικειµενικ(

;ακ(
4 Εστίαση ακρι<είας (
 δακτύλι
ς δια-

;ράγµατ
ς [2.3] έ�ει α;αιρεθεί)

1

6

7

4

3
5

2

1

4
3

2
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2.3 ∆ιάγραµµα συναρµ�λ�γησης

∆ιάγραµµα 2: Πλήρες %άσµα δ�µ�στ�ι�είων
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10 447 041 (500mm)

10 429 783

10 445 363

10 445 631

10 446 340

10 445 367

10 447 185 (500 mm)

10 445 387

10 446 341

10 446 100 (500mm)

10 445 156

10 441 597  100 mm
10 441 787  150 mm
10 431 692  175 mm
10 382 162  200 mm
Achromat

10 411 589 1.0x
Achromat

10 445 198

10 447 168

11 541 006
1”, 1x

11 541 007
2/3”,0.63x

11 541 016
1/2”,0.5x

10 445 928
1/3” ,
0.32x

10 445 929
1/2”, 0.5x

10 446 261 

10 404 207

0,5x 
10 447 177

1,0x
10 447 176

2,0x
10 447 178

10 447 179
10 447 206

10 315 306
10 447 207

10 447 083

10 447 175

11 446 261
2/3”,0.63x

11 446 307
2/3”,0.8x

11 541 038
0,55x-x1,1x

11 543 702
11 543 706

10 445 930
1x

SLR
camera housing

Leica
MPS30 / MPS60
photoautomats

B-Mount
3-chip 2/3”

CCD camera

B-Mount
3-chip 1/2”

CCD camera

1”
C-Mount

CCD camera

10 445 935

SLR
adapter 

1”, 2/3”, 1/2”, 1/3”
C-Mount, CCD cameras

Leica DC cameras

10 162 226

10 445 541

0,63x 10 445 201
0,5x 10 422 563
0,32x 10 422 564

10 446 120
8x
10 445 304
10x
10 445 305
16x 11 543 703

0,8x
10 446 360

Macroscope

10 447 129
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10 447 196

10 445 930
1x
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10 446 344

10 446 343

10 446 394

Objectives see page 8

10 446 307
0.8x

10 446 261
2/3”
0.63x

10 445 929
1/2”
0.5x

1”, 2/3”, 1/2”, 1/3”
C-Mount, CCD-Camera

Leica DC-Camera

CCD-Camera

Leica
MPS30 / MPS60

SLR-Camera
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2.4 Πρ�σαρµ�γείς

∆ιάγραµµα 3: Πρ�σαρµ�γείς, %�ρείς
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kι πρ
σαρµ
γείς ε&υπηρετ
ύν στην πρ
σ-
αρµ
γή πρ
αιρετικών ε&αρτηµάτων για τη
;ωτ
γρά;ηση και την παρατήρηση. kι
;
ρείς ε&υπηρετ
ύν στην πρ
σαρµ
γή τ
υ

ργάν
υ σε <άσεις, µη�ανήµατα και ε&
-
πλισµ( εργασίας. ∆ιατίθενται 
ι ακ(λ
υθ
ι
πρ
σαρµ
γείς και ;
ρείς:

– πρ
σαρµ
γέας <ιντε
κάµερας/;ωτ
-
γρα;ικής µη�ανής AS (10447204) 
για �ρήση µε ;
ρέα (10447196).

– πρ
σαρµ
γέας <ιντε
κάµερας/;ωτ
-
γρα;ικής µη�ανής Α (10447128) 
για �ρήση µε ;
ρέα µικρ
σκ
πί
υ
(10446394) ή <ρα�ί
νες εστίασης
(10446345, 10446343 και 10446344).

– πρ
σαρµ
γέας Y (10447109) για πρ
σ-
αρµ
γείς στερε
σκ
πικών µικρ
σκ
πίων
της σειράς Μ της Leica, συντελεστής
πρ
σαρµ
γέα 1,25×, καταν
µή ;ωτ(ς
50/50
για �ρήση µε ;
ρέα µικρ
σκ
πί
υ
(10446394) ή <ρα�ί
νες εστίασης
(10446345, 10446343 και 10446344).

kι πρ
σαρµ
γείς <ιντε
κάµερας/;ωτ
-
γρα;ικής µη�ανής και 
 πρ
σαρµ
γέας Y
πρ
σαρτώνται στ
 δακτύλι
 σε σ�ήµα V τ
υ
συστήµατ
ς 5
υµ και στερεών
νται στ

σύστηµα 5
υµ µε τη <ίδα Allen (1.9).

kµ
ίως, ανάµεσα στ
 σύστηµα 5
υµ και τ
ν
πρ
σαρµ
γέα µπ
ρεί να στερεωθεί και 
µ
-
α&
νικ(ς ;ωτισµ(ς (παράγρα;
ς 2.5).
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2.4.1 Ψη%ιακή απεικ�νιση µε
πρ�σαρµ�γέα 0ιντε�κάµερας/-
%ωτ�γρα%ικής µη�ανής AS

Στ
ν πρ
σαρµ
γέα <ιντε
κάµερας/;ωτ
-
γρα;ικής µη�ανής AS µπ
ρείτε να τ
π
θε-
τήσετε ψη;ιακές κάµερες και να δηµι
υρ-
γήσετε µια διάτα&η µικρών διαστάσεων για
ε&
ικ
ν(µηση �ώρ
υ. Η διάτα&η αυτή απ
-
τελείται απ(:
– τ
 σύστηµα 5
υµ Leica Z6 APO ή τ


Z16 APO, τ
ν αντικειµενικ( ;ακ( και
την πρ
αιρετική εστίαση ακρι<είας 

– τ
ν πρ
σαρµ
γέα <ιντε
κάµερας/;ωτ
-
γρα;ικής µη�ανής AS (10447204)

– τ
ν αντικειµενικ( ;ακ( <ιντε
κάµερας µε
σύνδεση C-Mount 

– ψη;ιακή κάµερα

Σύστηµα =�υµ ➔ Πρ�σαρµ�γέας 0ιντε�-
κάµερας/%ωτ�γρα%ικής µη�ανής AS
� sαλαρώστε τη <ίδα Allen (4.10) µε τ


παρε�(µεν
 κλειδί Allen.
� Πρ
σαρµ(στε τ
 σύστηµα 5
υµ (4.1) στ


δακτύλι
 σε σ�ήµα V τ
υ πρ
σαρµ
γέα
<ιντε
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής
AS (4.4) και σ;ί&τε τη <ίδα Allen (4.10).

Αντικειµενικ�ς %ακ�ς 0ιντε�κάµερας ➔
Σύστηµα =�υµ µε πρ�σαρµ�γέα 0ιντε�-
κάµερας/%ωτ�γρα%ικής µη�ανής AS 
� Βιδώστε την ψη;ιακή κάµερα (4.6) π
υ

θέλετε στ
 σπείρωµα C τ
υ αντι-
κειµενικ
ύ ;ακ
ύ <ιντε
κάµερας (4.5).

� Τ
π
θετήστε τ
ν αντικειµενικ( ;ακ(
<ιντε
κάµερας µε ψη;ιακή κάµερα στ
ν
πρ
σαρµ
γέα <ιντε
κάµερας/;ωτ
-
γρα;ικής µη�ανής AS (4.4) και σ;ί&τε τ
ν
κ
νδυλωτ( δακτύλι
 (4.11).

Πρ�σαρµ�γή σε 0άση
Για την πρ
σαρµ
γή σε <άση για µικρ
σκ
-
πία ανάκλασης ή διέλευσης της Leica ή στη
µεγάλη <άση <ρα�ί
να περιστρ
;ής πρέπει
να �ρησιµ
π
ιείται 
 ;
ρέας τ
υ πρ
σαρ-
µ
γέα AS (10447196).

Για σ�ετικές 
δηγίες ανατρέ&τε στην παρά-
γρα;
 2.6.

Σ�. 4 ∆ιάτα&η για ψη;ιακή απεικ(νιση µε
πρ
σαρµ
γέα <ιντε
κάµερας/;ωτ
-
γρα;ικής µη�ανής AS. ∆ε&ιά πλευρά
τ
υ Leica Z6 APO.

1 Σύστηµα 5
υµ Leica Z6 APO
2 Εστίαση ακρι<είας
3 Αντικειµενικ(ς ;ακ(ς
4 Πρ
σαρµ
γέας <ιντε
κάµερας/;ωτ
-

γρα;ικής µη�ανής AS
5 Αντικειµενικ(ς ;ακ(ς <ιντε
κάµερας µε

σύνδεση C-Mount
6 Ψη;ιακή κάµερα Leica
7 Φ
ρέας πρ
σαρµ
γέα AS
8 Βάση για µικρ
σκ
πία ανάκλασης
9 Πρ
σεγγιστικ(ς ρυθµιστής εστίασης µε

στήλη 500mm
10 Βίδα Allen για τη στερέωση τ
υ συστήµα-

τ
ς 5
υµ στ
ν πρ
σαρµ
γέα <ιντε
-
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής AS

11 Κ
νδυλωτ(ς δακτύλι
ς για τ
 <ίδωµα
τ
υ αντικειµενικ
ύ ;ακ
ύ <ιντε
κάµερας
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2.4.2 Ψη%ιακή απεικ�νιση µε 
πρ�σαρµ�γέα 0ιντε�κάµερας/-
%ωτ�γρα%ικής µη�ανής A

Στ
ν πρ
σαρµ
γέα <ιντε
κάµερας/;ωτ
-
γρα;ικής µη�ανής A µπ
ρείτε να τ
π
θετή-
σετε ψη;ιακές κάµερες �ρησιµ
π
ιώντας
αντικειµενικ( ;ακ( <ιντε
κάµερας. Η διά-
τα&η αυτή απ
τελείται απ(:
– τ
 σύστηµα 5
υµ Leica Z6 APO ή τ


Z16 APO, τ
ν αντικειµενικ( ;ακ( και την
πρ
αιρετική εστίαση ακρι<είας 

– τ
ν πρ
σαρµ
γέα <ιντε
κάµερας/;ωτ
-
γρα;ικής µη�ανής A (10447128)

– τ
ν αντικειµενικ( ;ακ( <ιντε
κάµερας µε
σύνδεση C-Mount 

– ψη;ιακή κάµερα

Συναρµ
λ(γηση (πως στην παράγρα;

2.4.1 (συναρµ
λ(γηση µε πρ
σαρµ
γέα
<ιντε
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής AS).

Πρ�σαρµ�γή σε 0άση
Για την πρ
σαρµ
γή σε <άση για µικρ
σκ
-
πία ανάκλασης ή διέλευσης της Leica ή στη
<άση <ρα�ί
να περιστρ
;ής πρέπει να
�ρησιµ
π
ιείται 
 ;
ρέας µικρ
σκ
πί
υ
(10446394).

Για �ρήση σε µη�ανήµατα ή ε&
πλισµ
ύς
εργασίας, συναρµ
λ
γήστε τ
ν ε&
πλισµ(
στ
υς <ρα�ί
νες εστίασης 10446345 (µπ
ρεί
να �ρησιµ
π
ιηθεί και για <άσεις <ρα�ί
να
περιστρ
;ής), 10446344 (για στήλες
κυκλικής διατ
µής, ∅ 25mm) ή 10446343.

Για σ�ετικές 
δηγίες ανατρέ&τε στην παρά-
γρα;
 2.6.

Σ�. 5 ∆ιάτα&η για ψη;ιακή απεικ(νιση µε
πρ
σαρµ
γέα <ιντε
κάµερας/;ωτ
-
γρα;ικής µη�ανής A. ∆ε&ιά πλευρά
τ
υ Leica Z16 APO.

1 Σύστηµα 5
υµ Leica Z16 APO
2 Εστίαση ακρι<είας
3 Αντικειµενικ(ς ;ακ(ς
4 Πρ
σαρµ
γέας <ιντε
κάµερας/

;ωτ
γρα;ικής µη�ανής A
5 Αντικειµενικ(ς ;ακ(ς <ιντε
κάµερας µε

σύνδεση C-Mount
6 Ψη;ιακή κάµερα Leica
7 Φ
ρέας µικρ
σκ
πί
υ (10446394)
8 Βίδα σύσ;ι&ης για τη στερέωση τ
υ

πρ
σαρµ
γέα <ιντε
κάµερας/;ωτ
-
γρα;ικής µη�ανής A σε ;
ρέα
µικρ
σκ
πί
υ

9 Βάση για µικρ
σκ
πία διέλευσης
HL RC™

10 Ρυθµιστής εστίασης, πρ
σεγγιστικ(ς/
ακρι<είας, µε στήλη 500mm

10aΠρ
σεγγιστικ(ς
10bΑκρι<είας
11 Βίδα Allen για τη στερέωση τ
υ συστή-

µατ
ς 5
υµ στ
ν πρ
σαρµ
γέα <ιντε
-
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής
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Objectives see page 8

10 446 345

10 446 344

10 446 343

LE
IC

A
  Z

6 
 A

PO

LE
IC

A
  Z

16
  A

PO

10 447 109

Z6 APO
10 447 174

Z16 APO
10 447 173

Stand see page 30

10 446 123

10 346 910
10 447 168

10 447 159
10 447 160
10 445 301
10 445 302
10 445 303

10 445 619
10 446 253

10 445 822

10 429 783
10 429 781

10 446 237
10 446 238

10 479 887

10 446 394

10 445 629

20 Leica Z6 APO & Z16 APO – Συναρµ
λ(γηση

2.4.3 Συναρµ�λ�γηση µε πρ�σαρµ�γέα Y 

∆ιάγραµµα 4: Πρ�σαρµ�γέας Y
µε δι�πτρικά συστήµατα 
παρατήρησης, ErgoModules®

και πρ�αιρετικά ε�αρτήµατα
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Σ�. 6 kπτικ(ς ε&
πλισµ(ς µε πρ
σαρµ
γέα Υ και ErgoTube®

1 Σύστηµα 5
υµ Leica Z16 APO
2 Εστίαση ακρι<είας
3 Αντικειµενικ(ς ;ακ(ς
4 Πρ
σαρµ
γέας Υ
5 ErgoTube® µε µετα<λητή γωνία παρα-

τήρησης 10° – 50°
6 Πρ
σ
;θάλµι
ι ;ακ
ί
7 Φ
ρέας µικρ
σκ
πί
υ (10446394)

8 Βίδα σύσ;ι&ης για τη στερέωση τ
υ
πρ
σαρµ
γέα Υ σε ;
ρέα µικρ
σκ
πί
υ

9 Βίδα Allen για τη στερέωση τ
υ συσ-
τήµατ
ς 5
υµ στ
ν πρ
σαρµ
γέα Υ

10 Βάση για µικρ
σκ
πία ανάκλασης
11 Μη�αν
κίνητη εστίαση µε στήλη 500mm
12 kλισθαίν
υσα τράπε5α
13 ∆ακτυλι
ειδής ;ωτισµ(ς
14 Πηγή ψυ�ρ
ύ ;ωτισµ
ύ

11

14

2
3

1

5

4
8
7

6

13

12

10

9

Με τ
ν πρ
σαρµ
γέα Υ µπ
ρείτε να πρ
σ-
αρµ(σετε δι
πτρικά συστήµατα παρατήρη-
σης, ErgoModules®, πρ
σαρµ
γείς <ιντε
-
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής και τη
µ
νάδα εικ(νας (<ίντε
) Leica IC A των
στερε
σκ
πικών µικρ
σκ
πίων της σειράς
Μ της Leica. Τα δι
πτρικά συστήµατα παρα-
τήρησης, τα ErgoModules® και 
ι πρ
σ-
αρµ
γείς <ιντε
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής
µη�ανής περιγρά;
νται στ
 εγ�ειρίδι


δηγιών �ρήσης M2-105-0.

� Συναρµ
λ
γήστε τ
ν πρ
σαρµ
γέα Υ και
τ
 σύστηµα 5
υµ µε τ
ν τρ(π
 π
υ περι-
γρά;εται στην παράγρα;
 2.4.1 (συν-
αρµ
λ(γηση µε πρ
σαρµ
γέα <ιντε
κά-
µερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής AS).

� Τ
π
θετήστε τ
 δι
πτρικ( σύστηµα παρα-
τήρησης, τ
ν πρ
σαρµ
γέα <ιντε
κάµε-
ρας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής ή τη µ
νάδα

π
υ επιθυµείτε στ
ν πρ
σαρµ
γέα Υ, σύµ-
;ωνα µε τ
 εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης
M2-105-0.

Πρ�σαρµ�γή σε 0άση
Για την πρ
σαρµ
γή σε <άση για µικρ
σκ
-
πία ανάκλασης ή διέλευσης της Leica ή στη
<άση <ρα�ί
να περιστρ
;ής πρέπει να �ρη-
σιµ
π
ιείται 
 ;
ρέας µικρ
σκ
πί
υ
(10446394).

Για �ρήση σε µη�ανήµατα ή ε&
πλισµ
ύς
εργασίας, συναρµ
λ
γήστε τ
ν ε&
πλισµ(
στ
υς <ρα�ί
νες εστίασης 10446345 (µπ
ρεί
να �ρησιµ
π
ιηθεί και για <άσεις <ρα�ί
να
περιστρ
;ής), 10446344 (για στήλες
κυκλικής διατ
µής, ∅ 25mm) ή 10446343.

Για σ�ετικές 
δηγίες ανατρέ&τε στην παρά-
γρα;
 2.6.



10 446 175

Objectives see page 8

10 445 541

10 445 930
1x

1”, 2/3”, 1/2”, 1/3”
C-Mount, CCD-Cameras

Leica DC-Cameras

11 541 006
1”,1x

11 541 007
2/3”,0.63x

11 541 016
1/2”,0.5x

10 445 924 50%
10 446 229 100%

10 446 121 8x
10 446 131 10x
10 446 132 16x

10 446 345

10 446 344

10 446 343

10 446 394

LE
IC

A
  Z

6 
 A

PO

LE
IC

A
  Z

16
  A

PO

10 447 109

Z6 APO
10 447 174

Z16 APO
10 447 173

1”, 2/3”, 1/2”, 1/3”
C-Mount, CCD-Cameras

Leica DC-Cameras Adapter
SLR 

10 162 226

SLR
Camera housing

10 445 932

10 446 120
8x
10 445 304
10x
10 445 305
16x

H
10 445 931

HD
10 446 197

10 446 307   0.8x
10 446 261   2/3”,0.63x
10 445 929   1/2”,0.5x
10 445 928   1/3”,0.32x

1”, 2/3”, 1/2”, 1/3”
C-Mount, CCD-Cameras

Leica DC-Cameras

3-Chip 2/3”
B-Mount

CCD-Camera

3-Chip 1/2”
B-Mount

CCD-Camera

3-Chip 1”
B-Mount

CCD-Camera

10 445 619

HU 10 446 174
HV 10 446 194

11 541 038
0.55x-1.1x

11 543 702 11 543 706

Leica
MPS30 / MPS60
Photoautomats

10 404 207

10 446 307
0.8x

10 446 261
2/3”,0.63x

10 445 929
1/2”,0.5x

10 445 928
1/3”,0.32x

11 543 703
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∆ιάγραµµα 5: Πρ�σαρµ�γέας Υ µε πρ�σαρµ�γείς 0ιντε�κάµερας/%ωτ�γρα%ικής µη�ανής
και πρ�αιρετικά ε�αρτήµατα
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Σ�. 7 ∆ιάτα&η για ψη;ιακή απεικ(νιση µε πρ
σαρµ
γέα Υ και πρ
σαρµ
γείς <ιντε
-
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής. ∆ε&ιά πλευρά τ
υ Leica Z16 APO.

1 Σύστηµα 5
υµ Leica Z16 APO
2 Εστίαση ακρι<είας
3 Αντικειµενικ(ς ;ακ(ς
4 Πρ
σαρµ
γέας Υ
5 Πρ
σαρµ
γέας <ιντε
κάµερας/;ωτ
-

γρα;ικής µη�ανής τριών ε&(δων
6 Αντικειµενικ(ς ;ακ(ς <ιντε
κάµερας
7 Ψη;ιακή κάµερα Leica
8 Πρ
σ
;θάλµι
ι ;ακ
ί
9 Φ
ρέας µικρ
σκ
πί
υ (10446394)

10 Βίδα σύσ;ι&ης για τη στερέωση τ
υ 

πρ
σαρµ
γέα Υ στ
ν ;
ρέα µικρ
σκ
-
πί
υ

11 Βίδα Allen για τη στερέωση τ
υ συστή-
µατ
ς 5
υµ στ
ν πρ
σαρµ
γέα Υ

12 Βάση για µικρ
σκ
πία διέλευσης
13 Ρυθµιστής εστίασης, πρ
σεγγιστικ(ς/

ακρι<είας, µε στήλη 500mm
13a Πρ
σεγγιστικ(ς
13b Ακρι<είας

Για σ�ετικές 
δηγίες ανατρέ&τε στην παρά-
γρα;
 2.4.3.
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2.5 Φωτισµ�ς 

Τα συστήµατα 5
υµ Leica Z6 APO και
Z16 APO µπ
ρ
ύν να �ρησιµ
π
ιηθ
ύν µε
διά;
ρα συστήµατα ;ωτισµ
ύ. Ρωτήστε τ

σύµ<
υλ
 της Leica σ�ετικά µε τις δυνατ(-
τητες π
υ έ�ετε. Ειδικά για τα Leica Z6 APO
και Z16 APO αναπτύ�θηκε 
 
µ
α&
νικ(ς
;ωτισµ(ς µε πλακίδι
 λ/4 για �ρήση µε
καλώδια 
πτικών ινών και πηγές ψυ�ρ
ύ
;ωτισµ
ύ. Με 
µ
α&
νικ( ;ωτισµ(
καθίστανται 
ρατά επίπεδα, εντ(νως ανα-
κλαστικά πλακίδια (wafer) και µεταλλικά
τµήµατα. Τ
 περιστρε;(µεν
 πλακίδι
 λ/4
αναδεικνύει π
ικίλες δ
µές µεταλλικών
τµηµάτων και LCD.

� Τ
π
θετήστε τ
 περί<ληµα της διάτα&ης
πρ
σπίπτ
ντ
ς 
µ
α&
νικ
ύ ;ωτισµ
ύ
(8.2) µε δακτύλι
 σε σ�ήµα V στ
 σύστηµα
5
υµ (8.1) και σ;ί&τε τη <ίδα Allen (8.16).

� Τ
 περί<ληµα της διάτα&ης πρ
σ-
πίπτ
ντ
ς 
µ
α&
νικ
ύ ;ωτισµ
ύ (8.2)
µπ
ρεί να στερεωθεί σε πρ
σαρµ
γέα
AS, A και Υ (8.9) µε 3 <ίδες Allen.

� Ε&
πλίστε τ
 σύστηµα 5
υµ (8.1) µε αντι-
κειµενικ( ;ακ( (8.8) και, ενδε�
µένως, µε
εστίαση ακρι<είας (8.7).

� Στερεώστε τ
 πλακίδι
 λ/4 (8.5) µε τη
<ίδα σύσ;ι&ης (8.6) στ
ν αντικειµενικ(
;ακ( (8.8).

� Συνδέστε τ
 καλώδι
 
πτικών ινών (8.3)
και την πηγή ψυ�ρ
ύ ;ωτισµ
ύ (8.4).

Περιστρέ;
ντας τ
 πλακίδι
 λ/4 στ
ν
κ
νδυλωτ( δακτύλι
 µπ
ρείτε να δια-
κρίνετε διά;
ρες δ
µές και θέσεις
ενεργ
π
ίησης των LCD.

Σ�. 8 kµ
α&
νικ(ς ;ωτισµ(ς µε πλακίδι
 λ/4

1 Σύστηµα 5
υµ Leica Z16 APO
2 Περί<ληµα διάτα&ης πρ
σπίπτ
ντ
ς


µ
α&
νικ
ύ ;ωτισµ
ύ 
3 Φωτισµ(ς 
πτικής ίνας 
4 Πηγή ψυ�ρ
ύ ;ωτισµ
ύ CLS
5 Περιστρε;(µεν
 πλακίδι
 λ/4 µε

κ
νδυλωτ( δακτύλι

6 Βίδα σύσ;ι&ης για τη στερέωση τ
υ

πλακιδί
υ λ/4
7 Εστίαση ακρι<είας
8 Αντικειµενικ(ς ;ακ(ς
9 Πρ
σαρµ
γέας Υ

10 Πρ
σαρµ
γέας <ιντε
κάµερας/;ωτ
-
γρα;ικής µη�ανής τριών ε&(δων

11 Αντικειµενικ(ς ;ακ(ς <ιντε
κάµερας
12 Ψη;ιακή κάµερα Leica
13 Πρ
σ
;θάλµι
ι ;ακ
ί
14 Φ
ρέας µικρ
σκ
πί
υ (10446394)
15 Βίδα σύσ;ι&ης για τη στερέωση τ
υ πρ
-

σαρµ
γέα Υ στ
ν ;
ρέα µικρ
σκ
πί
υ
16 Βίδα Allen για τη στερέωση τ
υ συστή-

µατ
ς 5
υµ στ
ν πρ
σαρµ
γέα Υ
17 Βάση για µικρ
σκ
πία ανάκλασης
18 kλισθαίν
υσα τράπε5α
19 Μη�αν
κίνητη εστίαση µε στήλη 500mm
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2.6 Στερέωση σε 0άσεις

Λά<ετε υπ(ψη την περιγρα;ή και τις
υπ
δεί&εις ασ;αλείας των <άσεων τ
υ
εγ�ειριδί
υ 
δηγιών �ρήσης M2-105-0.

Σε περίπτωση �ρήσης της µη�αν
-
κίνητης εστίασης, δια<άστε τ
 ειδικ(
εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης M2-267-1 και
ειδικά τις υπ
δεί&εις ασ;αλείας.

kι ;
ρείς και 
ι ;
ρείς µικρ
σκ
πί
υ ε&υ-
πηρετ
ύν στην πρ
σαρµ
γή <άσεων,
µη�ανηµάτων και ε&
πλισµών εργασίας.
∆ιατίθενται 
ι ;
ρείς π
υ ακ
λ
υθ
ύν:

– ;
ρέας (10447196) για τ
ν πρ
σαρµ
γέα
<ιντε
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής
AS (10447204

– ;
ρέας µικρ
σκ
πί
υ (10446394) ή
<ρα�ί
νες εστίασης (10446345, 10446343
και 10446344) για τ
ν πρ
σαρµ
γέα
<ιντε
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής Α
(10447128)

– ;
ρέας µικρ
σκ
πί
υ (10446394) ή
<ρα�ί
νες εστίασης (10446345, 10446343
και 10446344) για τ
ν πρ
σαρµ
γέα Υ
(10447109) 

kι ;
ρείς και 
ι ;
ρείς µικρ
σκ
πί
υ
στερεών
νται σε ρυθµιστή εστίασης µε µια
<ίδα Allen, (πως περιγρά;εται στ

εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης M2-105-0.

kι ;
ρείς και 
ι ;
ρείς µικρ
σκ
πί
υ
µπ
ρ
ύν να στερεωθ
ύν στ
 ρυθµιστή
εστίασης σε 2 θέσεις:
– Για µικρές απ
στάσεις εργασίας και επί-

πεδα αντικείµενα: κάτω γωνιακ( ε&άρτη-
µα. sρησιµ
π
ιείται επίσης σε περίπτωση
�ρήσης τ
υ πρ
σαρµ
γέα για κάθετη/
πλάγια παρατήρηση (<λέπε ειδικ(
εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης).

– Για µεγάλες απ
στάσεις εργασίας ή
µεγάλα αντικείµενα: επάνω γωνιακ(
ε&άρτηµα.
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10 447 041 (500mm)

10 445 363

10 445 631

10 445 367

10 447 185 (500 mm)
10 446 228

10 446 303

10 446 301

10 446 304

10 446 302

10 445 387

10 446 100 (500mm)
Objectives see page 8

LE
IC

A
  Z

6 
 A

PO
LE

IC
A

  Z
16

  A
PO

10 447 196

10 447 204
Z6 APO
10 447 174

10 447 109

10 447 128

10 446 394
Z16 APO
10 447 173

10 446 359

10 382 130

2.6.1Βάσεις για µικρ�σκ�πία ανάκλασης και διέλευσης µε στήλη 500mm

∆ιάγραµµα 6: Βάσεις για µικρ�σκ�πία ανάκλασης και διέλευσης και πρ�αιρετικά ε�αρτήµατα



1

3

4

5
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� Συναρµ
λ
γήστε τη <άση σύµ;ωνα µε τ

εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης M2-105-0.

� Στερεώστε τ
 ;
ρέα για τ
ν πρ
σαρµ
-
γέα AS (9.1) στ
 ρυθµιστή εστίασης (9.2)
µε τη <ίδα και τ
 κλειδί Allen.

• Η συναρµ
λ(γηση τ
υ ;
ρέα είναι ίδια
για τ
ν πρ
σεγγιστικ( ρυθµιστή εστία-
σης, τ
ν πρ
σεγγιστικ(/ακρι<είας ρυθµι-
στή εστίασης και τη µη�αν
κίνητη εστίαση.

� Πρ
σαρµ(στε τ
ν πρ
σαρµ
γέα <ιντε
-
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής AS (9.3)
απ� κάτω µέσω τ
υ αν
ίγµατ
ς τ
υ ;
-

ρέα και στερεώστε τ
ν στ
ν ;
ρέα απ(
πάνω �ρησιµ
π
ιώντας τις 3 <ίδες Allen.

� sαλαρώστε τη <ίδα Allen (9.4) µε τ
 παρ-
ε�(µεν
 κλειδί Allen.

� Πρ
σαρµ(στε τ
 σύστηµα 5
υµ (9.5) στ

δακτύλι
 σε σ�ήµα V τ
υ πρ
σαρµ
γέα
<ιντε
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής
AS (9.3) και σ;ί&τε τη <ίδα Allen (9.4).

Τ
π
θετήστε την ψη;ιακή κάµερα µε τ
ν
τρ(π
 π
υ περιγρά;εται στην παράγρα;

2.4.1.

Σ�. 9 ∆ιάτα&η µε ;
ρέα για πρ
σαρµ
γέα <ιντε
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής AS

2
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3

4
6

5

2

1

10a

10b

9

� Συναρµ
λ
γήστε τη <άση σύµ;ωνα µε τ

εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης M2-105-0.

� Στερεώστε τ
 ;
ρέα µικρ
σκ
πί
υ (10.1)
στ
 ρυθµιστή εστίασης (10.2) µε τη <ίδα
και τ
 κλειδί Allen.

• Η συναρµ
λ(γηση τ
υ ;
ρέα είναι ίδια
για τ
ν πρ
σεγγιστικ( ρυθµιστή
εστίασης, τ
ν πρ
σεγγιστικ(/ακρι<είας
ρυθµιστή εστίασης και τη µη�αν
κίνητη
εστίαση.

� Εισαγάγετε τ
ν πρ
σαρµ
γέα <ιντε
-

κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής A (10.3)
απ� πάνω στ
 άν
ιγµα τ
υ ;
ρέα και
σ;ί&τε τη <ίδα σύσ;ι&ης (10.4).

� Πρ
σαρµ(στε τ
 σύστηµα 5
υµ (10.5) στ

δακτύλι
 σε σ�ήµα V τ
υ πρ
σαρµ
γέα
<ιντε
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής
Α (10.3) ή στ
ν πρ
σαρµ
γέα Υ (6.4) και
σ;ί&τε τη <ίδα Allen (10.6).

Τ
π
θετήστε την ψη;ιακή κάµερα µε τ
ν
τρ(π
 π
υ περιγρά;εται στην παράγρα;

2.4.2.

Σ�. 10 ∆ιάτα&η µε ;
ρέα µικρ
σκ
πί
υ για πρ
σαρµ
γέα <ιντε
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής
µη�ανής Α ή για πρ
σαρµ
γέα Υ
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LE
IC

A
  Z

6 
 A

PO

10 447 204

Z6 APO
10 447 174

10 447 109

10 447 128

Z16 APO
10 447 173

10 446 299

13 312 610

10 376 070

13 312 614

10 439 097

10 445 626

10 446 259

10 445 913
10 446 101

10 446 344

10 446 345

10 446 394

10 447 196

10 439 096

10 445 152

10 445 153   (450mm)
10 445 154   (800mm)

10 439 170

Objectives see page 8 

2.6.2 Βάσεις 0ρα�ί�να περιστρ�%ής

∆ιάγραµµα 7: Βάσεις 0ρα�ί�να περιστρ�%ής και πρ�αιρετικά ε�αρτήµατα
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Βάση 0ρα�ί�να περιστρ�%ής ESD

Η <άση <ρα�ί
να περιστρ
;ής ESD �ρησι-
µ
π
ιείται µ(ν
 µε τ
 σύστηµα 5
υµ Leica
Z6 APO ενώ τ
 Z16 APO �ρησιµ
π
ιείται µε
τη µεγάλη <άση <ρα�ί
να περιστρ
;ής.
Για την πρ
σαρµ
γή τ
υ συστήµατ
ς 5
υµ
στη <άση <ρα�ί
να περιστρ
;ής ESD
�ρησιµ
π
ιήστε τ
ν <ρα�ί
να εστίασης µε
δυνατ(τητα κλίσης (10446345) µε πείρ
. Στ

<ρα�ί
να εστίασης µε δυνατ(τητα κλίσης
µπ
ρεί να τ
π
θετηθεί 
 πρ
σαρµ
γέας
<ιντε
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής Α
και 
 πρ
σαρµ
γέας Υ.

Λά<ετε υπ(ψη την περιγρα;ή και τις
υπ
δεί&εις ασ;αλείας τ
υ εγ�ειριδί
υ

δηγιών �ρήσης M2-105-0.
� Συναρµ
λ
γήστε τη <άση (11.1) και στε-

ρεώστε µε πείρ
 τ
 <ρα�ί
να εστίασης µε
δυνατ(τητα κλίσης (11.2), σύµ;ωνα µε τ

εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης M2-105-0.

� Συναρµ
λ
γήστε τ
 σύστηµα 5
υµ (11.5)
και τ
ν πρ
σαρµ
γέα <ιντε
κάµερας/-
;ωτ
γρα;ικής µη�ανής A ή τ
ν πρ
σ-
αρµ
γέα Υ (11.3) µε τ
ν τρ(π
 π
υ περι-
γρά;εται στ
 κε;άλαι
 2.

Σ�. 11 µε <άση <ρα�ί
να περιστρ
;ής ESD
1 Βάση <ρα�ί
να περιστρ
;ής ESD µε

πέλµα, στήλη και 
ρι5(ντι
 <ρα�ί
να
2 Βρα�ί
νας εστίασης, µε δυνατ(τητα

κλίσης
3 Πρ
σαρµ
γέας Υ
4 Πλάγι
 δι
πτρικ( σύστηµα παρατήρησης

45°
5 Σύστηµα 5
υµ Leica Z6 APO
6 Αντικειµενικ(ς ;ακ(ς
7 ∆ακτυλι
ειδής ;ωτισµ(ς µε πηγή ψυ�ρ
ύ

;ωτισµ
ύ

4

3

5

6

7

1

2
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2.6.3 Μεγάλη 0άση 0ρα�ί�να
περιστρ�%ής 

Μπ
ρείτε να �ρησιµ
π
ιήσετε τη µεγάλη
<άση <ρα�ί
να περιστρ
;ής µε τ
 Leica
Z6 APO ή τ
 Z16 APO. Έ�ετε διά;
ρες επι-
λ
γές �ρήσης τ
υ συστήµατ
ς 5
υµ µε τη
µεγάλη <άση <ρα�ί
να περιστρ
;ής:
– µε <ρα�ί
να εστίασης µε δυνατ(τητα

κλίσης, (10446345) (πως και στην περί-
πτωση της <άσης <ρα�ί
να περιστρ
;ής
ESD. Στ
 <ρα�ί
να εστίασης µε δυνατ(-
τητα κλίσης µπ
ρεί να τ
π
θετηθεί 

πρ
σαρµ
γέας <ιντε
κάµερας/;ωτ
γρα-
;ικής µη�ανής Α και 
 πρ
σαρµ
γέας Υ.

– για �ρήση µε τη µη�αν
κίνητη εστίαση ή
µε τ
 ρυθµιστή εστίασης µε στήλη µε
δυνατ(τητα κλίσης, πρ
σεγγιστικ( ή
πρ
σεγγιστικ(/ακρι<είας, και µε τ
 ;
ρέα
(10447196) για τ
ν πρ
σαρµ
γέα <ιντε
-
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής AS ή µε
τ
 ;
ρέα µικρ
σκ
πί
υ (10446394),
ε;(σ
ν �ρησιµ
π
ιείτε τ
ν πρ
σαρµ
γέα
<ιντε
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής Α
ή τ
ν πρ
σαρµ
γέα Υ.

– µε <ρα�ί
να εστίασης (10446344), ε;(σ
ν
�ρησιµ
π
ιείτε τη ρά<δ
 ;
ρέα ∅ 25mm
µε δυνατ(τητα κλίσης. Στ
 <ρα�ί
να
εστίασης για στήλες ∅ 25mm µπ
ρεί να
τ
π
θετηθεί 
 πρ
σαρµ
γέας <ιντε
-
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής Α και 

πρ
σαρµ
γέας Υ.

Λά<ετε υπ(ψη την περιγρα;ή και τις
υπ
δεί&εις ασ;αλείας τ
υ εγ�ειριδί
υ

δηγιών �ρήσης M2-105-0.

� Συναρµ
λ
γήστε τη <άση και στερεώστε
τ
υς <ρα�ί
νες εστίασης σύµ;ωνα µε τ

εγ�ειρίδι
 
δηγιών �ρήσης M2-105-0.

� Συναρµ
λ
γήστε τ
 σύστηµα 5
υµ και
τ
ν πρ
σαρµ
γέα <ιντε
κάµερας/;ωτ
-
γρα;ικής µη�ανής ή τ
ν πρ
σαρµ
γέα Υ
µε τ
ν τρ(π
 π
υ περιγρά;εται στην
παράγρα;
 2.4.

2.6.4 OEM (original equipment
manufacturer) 

Για τη �ρήση σε µη�ανές συγκ(λλησης,
µικρ
συγκ
λλητές, µη�ανές ή ε&
πλισµ(
εργασίας διατίθενται 
ι ε&ής <ρα�ί
νες
εστίασης:
– <ρα�ί
νας εστίασης (10446345) µε

υπ
δ
�είς πείρων ∅ 15,8mm (5/8)
– <ρα�ί
νας εστίασης (10446344) για

στήλες κυκλικής διατ
µής, ∅ 25mm,
και µη�ανές συγκ(λλησης

– <ρα�ί
νας εστίασης (10446343) για
µικρ
συγκ
λλητές

kι <ρα�ί
νες εστίασης µπ
ρ
ύν να �ρησι-
µ
π
ιηθ
ύν µε τ
ν πρ
σαρµ
γέα <ιντε
-
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής A ή µε τ
ν
πρ
σαρµ
γέα Υ.

� Συναρµ
λ
γήστε τ
 σύστηµα 5
υµ και
τ
ν πρ
σαρµ
γέα <ιντε
κάµερας/;ωτ
-
γρα;ικής µη�ανής Α ή τ
ν πρ
σαρµ
γέα
Υ µε τ
ν τρ(π
 π
υ περιγρά;εται στην
παράγρα;
 2.4.
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3.1 Θέση σε λειτ�υργία για πρώτη
%�ρά

bταν ενεργ�π�ιείτε ηλεκτρικά ε�αρ-
τήµατα, να λαµ0άνετε υπ�ψη τ�υς καν�νες
ασ%άλειας.

3.2 Συστήµατα =�υµ

– Τ
 σύστηµα 5
υµ Leica Z6 APO µε 5
υµ
6.3:1 επιτρέπει την αδια<άθµητη µετα-
<
λή της µεγέθυνσης απ( 0,57× – 3,6×.

– Τ
 σύστηµα 5
υµ Leica Z6 APO µε 5
υµ
16:1 επιτρέπει την αδια<άθµητη µετα-
<
λή της µεγέθυνσης απ( 0,57× – 9,2×.

– Για επαναλαµ<αν(µενες εργασίες
µπ
ρ
ύν να ενεργ
π
ιηθ
ύν συγ-
κεκριµένες ρυθµίσεις 5
υµ:
Στη συσκευή Leica Z6 APO είναι 
ι θέσεις
0,57 / 0,8 / 1 / 1,25 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3,2 / 3,6
Στη συσκευή Leica Z16 APO είναι 
ι
θέσεις 0,57 / 0,8 / 1 / 1,25 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3,2
/ 4 / 5 / 6,3 / 8 / 9,2

– Με πρ
σαρµ
γέα Υ η µεγέθυνση αυ&άνε-
ται κατά τ
 συντελεστή 1,25. Στ
ν πίνακα
της σελ. 49 δίν
νται τα 
πτικά δεδ
µένα
µε πρ
σαρµ
γέα Υ.

3. 'ειρισµ�ς
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Σ�. 12 |
υµ, αναστ
λέας 5
υµ: αριστερά, σύστηµα 5
υµ Leica Z16 APO µε εστίαση ακρι-
<είας και αντικειµενικ( ;ακ(. ∆ε&ιά, σύστηµα 5
υµ Leica Z6 APO µε αντικειµενικ( ;ακ(.

1 Κ
νδυλωτ(ς δακτύλι
ς για τη ρύθµιση
τ
υ 5
υµ

2 Κλίµακα µε τ
υς συντελεστές
µεγέθυνσης

3 ∆ιακ(πτης για την ενεργ
π
ίηση/-
απενεργ
π
ίηση τ
υ αναστ
λέα τ
υ 5
υµ

4 Εστίαση ακρι<είας 
5 Βίδα σύσ;ι&ης για τη ρύθµιση και την

ασ;άλιση τ
υ δια;ράγµατ
ς ίριδας 
6 Αντικειµενικ(ς ;ακ(ς

5

2

1

66

4

2

1

5

3
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� Ρυθµίστε τη µεγέθυνση περιστρέ;
ντας
τ
ν κ
νδυλωτ( δακτύλι
 (12.1).

� Μπ
ρείτε να δια<άσετε τις τιµές 5
υµ
(συντελεστές µεγέθυνσης) απ( την
κλίµακα (12.2).

� Ενεργ
π
ιήστε/απενεργ
π
ιήστε τ
ν
αναστ
λέα τ
υ 5
υµ µε πάτηµα τ
υ
διακ(πτη (12.3).

3.3 ∆ιά%ραγµα ίριδας

Τ
 ενσωµατωµέν
 διά;ραγµα ίριδας ε&υ-
πηρετεί στην αδια<άθµητη ρύθµιση τ
υ
<άθ
υς πεδί
υ �ωρίς µετα<
λή της µεγέ-
θυνσης. Τ
 <άθ
ς πεδί
υ µπ
ρεί να δι-
ευρυνθεί µε µείωση της διαµέτρ
υ τ
υ δια-
;ράγµατ
ς. Στην περίπτωση αυτή, 
 κών
ς
;ωτ(ς µικραίνει και η ;ωτειν(τητα της
εικ(νας µειώνεται.
Η <ίδα σύσ;ι&ης (12.5) ε&υπηρετεί στη
ρύθµιση και την ασ;άλιση τ
υ δια;ράγµα-
τ
ς ίριδας : 1 = µικρ(τερη διάµετρ
ς,
5 = εντελώς αν
ικτ(.

3.4 Εστίαση ακρι0είας

Η εστίαση ακρι<είας επιτρέπει την επακρι<ή
εστίαση στα 10mm. Η εστίαση ακρι<είας
είναι απαραίτητη, για να είναι ε;ικτή η
επακρι<ής εστίαση στις υψηλές τιµές
µεγέθυνσης, ειδικ(τερα (ταν �ρησιµ
-
π
ι
ύνται αντικειµενικ
ί ;ακ
ί µικρ
-
σκ
πί
υ.

� Ρυθµίστε την ευκρίνεια περιστρέ;
ντας
τ
ν κ
νδυλωτ( δακτύλι
 (12.4).
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3.5 Εργασία µε δι�πτρικ� σύστηµα
παρατήρησης

k πρ
σαρµ
γέας Υ επιτρέπει τη �ρήση των
συστηµάτων 5
υµ µε τα δι
πτρικά συστή-
µατα παρατήρησης και τ
υς πρ
σαρµ
γείς
<ιντε
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής
τριών ε&(δων των στερε
σκ
πικών µικρ
-
σκ
πίων της σειράς Μ της Leica.

Συµ0�υλευθείτε τ� εγ�ειρίδι� �δη-
γιών �ρήσης M1-105-0, για να εκτελέσετε
επιµέρ�υς ρυθµίσεις, �πως την απ�σταση
µατιών, τη γωνία παρατήρησης, τ�υς απ�-
σπώµεν�υς δακτυλί�υς ε%αρµ�γής µατιών,
τ�υς %ακ�ύς, την απ�σταση των �%θαλµών
κ�κ.

3.5.1 Ρύθµιση δι�πτριών

k παρατηρητής µπ
ρεί να αντισταθµίσει τα
πιθανά πρ
<λήµατα (ρασης µε τ
υς δύ

πρ
σ
;θάλµι
υς ;ακ
ύς. Για τ
 λ(γ

αυτ(ν, 
ι πρ
σ
;θάλµι
ι ;ακ
ί είναι ε;
-
διασµέν
ι µε ρυθµι5(µεν
υς ;ακ
ύς, π
υ
µπ
ρ
ύν να ρυθµιστ
ύν µε κ
νδυλωτ
ύς
δακτυλί
υς. kι τιµές δι
πτρίας µπ
ρ
ύν να
κυµαίν
νται απ( +5 έως –5. Κάθε παρα-
τηρητής πρέπει να 
ρίσει τις δικές τ
υ
τιµές δι
πτρίας µ(ν
 1×.

Η σωστή ρύθµιση είναι απαραίτητη, πρ
-
κειµέν
υ η εστίαση να παραµένει σταθερή
(ταν κάνετε 5
υµ (παρεστιακή). }ταν η
ρύθµιση είναι σωστή, δεν πρέπει να εστιά-
σετε &ανά (ταν κάνετε 5
υµ.

Π�ρεία εργασίας

� Ρυθµίστε τ
 σύστηµα 5
υµ στην απ(-
σταση εργασίας (13.5) τ
υ �ρησιµ
π
ι
ύ-
µεν
υ αντικειµενικ
ύ ;ακ
ύ (<λέπε
πίνακα στη σελ. 49).

� Ρυθµίστε την απ(σταση µατιών (13.1).
� Αν
ί&τε εντελώς τ
 διά;ραγµα ίριδας

(13.6).
� Ρυθµίστε τ
υς ;ακ
ύς (13.2) στ
 0.

� Επιλέ&τε την υψηλ(τερη τιµή για τ
 5
υµ
(13.7).

� Φωτίστε ένα επίπεδ
 δ
κίµι
 µε ευκρινές
περίγραµµα �ρησιµ
π
ιώντας ;ωτισµ(
απ( πάνω ή απ( κάτω και εστιάστε µε τ

ρυθµιστή εστίασης (13.8).

� Περιστρέψτε τ
υς ;ακ
ύς (13.2) µέ�ρι
τέρµα κατά την κατεύθυνση +, �ωρίς να
κ
ιτά&ετε µέσα απ( τ
υς πρ
σ-

;θάλµι
υς ;ακ
ύς.

� Επιλέ&τε τη µικρ(τερη τιµή για τ
 5
υµ
(13.7).

� Ρυθµίστε την ευκρίνεια διαδ
�ικά για
κάθε µάτι περιστρέ;
ντας τ
υς ;ακ
ύς
(13.2): Παρατηρήστε, για παράδειγµα, τ

αντικείµεν
 µε τ
 αριστερ( µάτι
κρατώντας τ
 δε&ί µάτι κλειστ(. Περι-
στρέψτε αργά τ
 ;ακ( (13.2) κατά την
κατεύθυνση –, έως (τ
υ τ
 αν
ικτ( µάτι
να <λέπει ευκρινώς τ
 δ
κίµι
.

� Κλείστε τώρα τ
 αριστερ( µάτι και
ρυθµίστε τ
 ;ακ( (13.2) για τ
 δε&ί µάτι.

� Επιλέ&τε την υψηλ(τερη τιµή για τ
 5
υµ
(13.7).

� Αν �ρειά5εται, εστιάστε επακρι<ώς µε τ

ρυθµιστή εστίασης (13.8).

� Επιλέ&τε τη µικρ(τερη τιµή για τ
 5
υµ
(13.7).

� Ελέγ&τε την ευκρίνεια και την παρ-
εστίαση: Κάντε αργά 5
υµ µέ�ρι την
υψηλ(τερη τιµή 5
υµ (13.7).

Η ευκρίνεια πρέπει να παραµένει
σταθερή για κάθε τιµή µεγέθυνσης, �ωρίς
να �ρειά5εται να εστιάσετε &ανά µε τ

ρυθµιστή εστίασης.
Αν δεν συµ<αίνει αυτ(, επαναλά<ετε τη
διαδικασία π
υ περιγρά;ηκε.
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Σ�. 13 Παρεστίαση, 
πτική

1 Ρυθµι5(µεν
ι υπ
δ
�είς πρ
σ
;θάλµιων
;ακών για τη ρύθµιση της απ(στασης
µατιών µετα&ύ 52mm – 76mm

2 Φακ
ί για τη ρύθµιση των δι
πτριών απ( 
+5 έως –5

3 Ρυθµι5(µεν
ι δακτύλι
ι ε;αρµ
γής
µατιών

4 ErgoTube® µε µετα<λητή γωνία
παρατήρησης 10° – 50°

5 Απ(σταση εργασίας 
6 ∆ιά;ραγµα ίριδας
7 Κ
νδυλωτ(ς δακτύλι
ς για τη ρύθµιση

τ
υ 5
υµ
8 Ρυθµιστής εστίασης (ενδε�
µένως

µη�αν
κίνητη εστίαση)

3

2

1

7

5

2

4

6

8
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4.1 ∆ιαστάσεις 

4.1.1 ∆ιαστάσεις συστηµάτων =�υµ

4. Παράρτηµα

Leica Z6 APO

Leica Z16 APO
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4.1.2 ∆ιαστάσεις αντικειµενικών %ακών
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4.1.3 ∆ιαστάσεις πρ�σαρµ�γέων

Πρ�σαρµ�γέας
0ιντε�κάµερας/
%ωτ�γρα%ικής
µη�ανής AS

Πρ�σαρµ�γέας Υ



A-Video-/Fototubus
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Πρ�σαρµ�γέας 0ιντε�-
κάµερας/%ωτ�γρα%ικής

µη�ανής A
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Φ�ρέας πρ�σαρµ�γέα AS4.1.4 ∆ιαστάσεις %�ρέων
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Βρα�ί�νας εστίασης για
µικρ�συγκ�λλητές
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4.1.5 ∆ιαστάσεις πρ�σαρµ�γέων

4.1.6 ∆ιαστάσεις περι0λήµατ�ς
διάτα�ης πρ�σπίπτ�ντ�ς
�µ�α��νικ�ύ %ωτισµ�ύ

Koaxial-Auflichtgehäuse

Πρ�σαρµ�γέας για α�ρωµατι-
κ�ύς αντικειµενικ�ύς %ακ�ύς

Πρ�σαρµ�γέας για αντι-
κειµενικ�ύς %ακ�ύς DM

Περί0ληµα διάτα�ης
πρ�σπίπτ�ντ�ς
�µ�α��νικ�ύ
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4.2 Τε�νικά �αρακτηριστικά

Σύστηµα =�υµ Leica Z6 APO Leica Z16 APO

Τύπ
ς απ
�ρωµατικ( σύστηµα 5
υµ απ
�ρωµατικ( σύστηµα 5
υµ 16:1 
6.3:1 (συντελεστής 5
υµ (συντελεστής 5
υµ 0,57× – 9,2×)
0,57× – 3,6×) µε 
πτική διαδρ
µή, µε κεντρική κεντρική 
πτική 
�ωρίς µ(λυ<δ
 διαδρ
µή, �ωρίς µ(λυ<δ


Ενσωµατωµέν
 αδια<άθµητη ρύθµιση τ
υ <άθ
υς πεδί
υ
διά;ραγµα ίριδας 

Επιλέ&ιµες  0,57 / 0,8 / 1 / 1,25 / 1,6 / 2 / 2,5 / 3,2 / 0,57 / 0,8 / 1 / 1,25 / 1,6 / 2 / 2,5 / 
ρυθµίσεις 5
υµ για 3,6 3,2 / 4 / 5 / 6,3 / 8 / 9,2 
επαναλαµ<αν(µενες εργασίες 

dπτικά µε επίπεδ�υ πεδί�υ απ��ρωµατικ� αντικειµενικ� %ακ� 1× / πρ�σ�%θάλµι�υς %ακ�ύς 10× /
πρ�σαρµ�γέα Υ 1,25×

– Μεγέθυνση 7,1× – 45× 7,1× – 115×
– Ανάλυση 60 – 351Lp/mm 51 – 336Lp/mm
– kρατ( πλάτ
ς δ
µής 16,7 – 2,85µm 19,6 – 2,98µm
– Αριθµητικ( άν
ιγµα 0,02 – 0,117nA 0,017 – 0,112nA
– kπτικ( πεδί
 ∅ 29,5mm – 4,7mm 29,5mm – 1,83mm
– Βάθ
ς πεδί
υ 3,1mm – 0,09mm 3,8mm – 0,05mm

dπτικά µε επίπεδ�υ πεδί�υ απ��ρωµατικ� αντικειµενικ� %ακ� 2 × / πρ�σ�%θάλµι�υς %ακ�ύς 40 × /
πρ�σαρµ�γέα Υ 1,25×

Μεγέθυνση 57× – 360× 57× – 920×
Ανάλυση 120 – 702Lp/mm 102 – 672Lp/mm
kρατ( πλάτ
ς δ
µής 8,3 – 1,4µm 9,8 – 1,49µm
Αριθµητικ( άν
ιγµα 0,04 – 0,234nA 0,034 – 0,224nA
kπτικ( πεδί
 ∅ 4,2mm – 0,67mm 4,2mm – 0,26mm

'αρακτηριστικά µε ψη%ιακή κάµερα Leica DC480 / επίπεδ�υ πεδί�υ απ��ρωµατικ� αντικειµενικ� %ακ� 1× /
πρ�σαρµ�γέα AS / αντικειµενικ� %ακ� 0ιντε�κάµερας 0,63×

– Μεγέθυνση 0,36× – 2,3× 0,36× – 5,8×
kλ
κληρωµέν
 κύκλωµα: δ
κίµι


– Μεγέθυνση 5,3 × – 33,5× 5,3 × – 85,6×
Εκτύπωση: δ
κίµι


– Ψη;ιακή ανάλυση 26,4 – 167Lp/mm 26,4 – 336Lp/mm
– Ανάλυση εκτύπωσης 15,7 – 99Lp/mm 15,7 – 253Lp/mm
– kπτικ( πεδί
 24,5mm × 18,6mm / 3,8mm × 2,9mm 24,5mm × 18,6mm / 1,5mm × 1,15mm

πρ
<αλλ(µεν
 στ
 

λ
κληρωµέν
 κύκλωµα

– Βάθ
ς πεδί
υ 1,16 – 0,03mm 1,5 – 0,03mm
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dπτικά πρ�αιρετικά ε�αρτήµατα Leica Z6 APO / Leica Z16 APO

Αντικειµενικ
ί ;ακ
ί – επίπεδ
υ πεδί
υ απ
�ρωµατικ
ί 1×, 2×, 0,8×, 0,5×
– απ
�ρωµατικ
ί αντικειµενικ
ί ;ακ
ί της σειράς M 0,63×, 0,5×, 0,32×, �ωρίς

µ(λυ<δ
 

Απ
στάσεις εργασίας – 97mm (επίπεδ
υ πεδί
υ απ
�ρωµατικ(ς 1×)
– 112mm (επίπεδ
υ πεδί
υ απ
�ρωµατικ(ς 0,8×)
– 39mm (επίπεδ
υ πεδί
υ απ
�ρωµατικ(ς 2×)
– 187mm (επίπεδ
υ πεδί
υ απ
�ρωµατικ(ς 0,5×)
– 149mm (α�ρωµατικ(ς 0,63×)
– 187mm (α�ρωµατικ(ς 0,5×)
– 297mm (α�ρωµατικ(ς 0,32×)

Πρ
σαρµ
γέας 
αντικειµενικ
ύ ;ακ
ύ – για α�ρωµατικ
ύς αντικειµενικ
ύς ;ακ
ύς της σειράς M

– για αντικειµενικ
ύς ;ακ
ύς HR 10× και 20×
– για αντικειµενικ
ύς ;ακ
ύς DM 10× και 20×

Αντικειµενικ
ί ;ακ
ί HR – HR 10×/0,45, απ(σταση εργασίας 19mm
– HR 20×/0,42, απ(σταση εργασίας 13mm

Αντικειµενικ
ί ;ακ
ί DM – αντικειµενικ(ς ;ακ(ς DM N Plan L 20×/0,40 corr
– αντικειµενικ(ς ;ακ(ς DM N Plan 10×/0,25–/A5.8

Εστίαση ακρι<είας διαδρ
µή 10mm

∆ι
πτρικά συστήµατα – δι
πτρικ
ί πρ
σαρµ
γείς κάθετης και πλάγιας παρατήρησης 
παρατήρησης, εργ
ν
µία – απ
�ρωµατικ( ErgoTube® 10 – 50 µε συγ�ρ
νισµένη ρύθµιση της απ(στασης

µατιών
– διά;
ρα ErgoModules® (πρ
αιρετικά)

Τα ErgoTube® και ErgoModule® είναι κατα�ωρηµένα στ� 
"United States Patent and Trademark Office"

Απ(σταση µετα&ύ 
των µατιών 55mm – 75mm

Ευρυγώνι
ι 10×, 16×, 25×, 40×, �ωρίς παραµ(ρ;ωση
πρ
σ
;θάλµι
ι ;ακ
ί για απ
σπώµεν
ι δακτύλι
ι ε;αρµ
γής µατιών για πρ
στασία απ( µ
λύνσεις
�ρήστες µε γυαλιά 
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Τε�νικά �αρακτηριστικά

Περι0αλλ�ντικές συνθήκες κατά τη λειτ�υργία:

– Θερµ
κρασία 
περι<άλλ
ντ
ς +10 °C έως +40 °C

– Σ�ετική υγρασία έως 35 °C θερµ
κρασία περι<άλλ
ντ
ς: 75% 

– Ατµ
σ;αιρική πίεση 700 ... 1060 hPa

Μετα%�ρά και απ�θήκευση:

– Θερµ
κρασία –20 °C ... +52 °C

– Σ�ετ. υγρασία 10 ... 95% (άνευ συµπύκνωσης)

– Πίεση αέρα 500 ... 1200hPa

Βάρη

– 10447174 σύστηµα 5
υµ Leica Z6 APO 0,590 kg

– 10447173 σύστηµα 5
υµ Leica Z16 APO 0,760 kg

– 10447176 επίπεδ
υ πεδί
υ απ
�ρωµατικ(ς αντικειµενικ(ς ;ακ(ς 1× 0,150 kg

– 10447178 επίπεδ
υ πεδί
υ απ
�ρωµατικ(ς αντικειµενικ(ς ;ακ(ς 2× 0,270 kg 

– 10446360 επίπεδ
υ πεδί
υ απ
�ρωµατικ(ς αντικειµενικ(ς ;ακ(ς 0,8× 0,170 kg

– 10447177 επίπεδ
υ πεδί
υ απ
�ρωµατικ(ς αντικειµενικ(ς ;ακ(ς 0,5× 0,170 kg

– 10447175 εστίαση ακρι<είας 0,100 kg

– 10447204 πρ
σαρµ
γέας <ιντε
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής AS 0,120 kg 

– 10447128 πρ
σαρµ
γέας <ιντε
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής µη�ανής A 0,200 kg

– 10447109 πρ
σαρµ
γέας Υ 0,430 kg

– 10447196 ;
ρέας πρ
σαρµ
γέα AS 0,340 kg

– 10446394 ;
ρέας µικρ
σκ
πί
υ 0,440 kg

– 10447185 ρυθµιστής εστίασης πρ
σεγγιστικ(ς/
ακρι<είας µε στήλη 500mm 1,650 kg

– µη�αν
κίνητη εστίαση µε στήλη 500mm 4,640 kg

– 10446261 αντικειµενικ(ς ;ακ(ς <ιντε
κάµερας 0,63× 0,150 kg

– 10445929 αντικειµενικ(ς ;ακ(ς <ιντε
κάµερας 0,5× 0,150 kg

– 10447170 περί<ληµα διάτα&ης πρ
σπίπτ
ντ
ς 
µ
α&
νικ
ύ ;ωτισµ
ύ 0,190 kg

– 10445352 πλακίδι
 λ/4 0,060 kg

– 10447179 πρ
σαρµ
γέας αντικειµενικών ;ακών DM 0,030 kg

– 10447178 πρ
σαρµ
γέας αντικειµενικών ;ακών HR 0,030 kg

– 10446229 πρ
σαρµ
γέας <ιντε
κάµερας/;ωτ
γρα;ικής 
µη�ανής τριών ε&(δων 1,380 kg

– 10447160 2× ευρυγώνι
ι πρ
σ
;θάλµι
ι ;ακ
ί για 
�ρήστες µε γυαλιά 10×/21B 0,320 kg
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Αντικειµενικ�ί Planapochromatic 1× Planapochromatic 0.5× Planapochromatic 0.8× Planapochromatic 2×

Απ�στάσεις εργασίας

97mm 187mm 112mm 39mm
Πρ�σ�%- Θέση Συν
λική ∆ιάµετρ
ς Συν
λική ∆ιάµετρ
ς Συν
λική ∆ιάµετρ
ς Συν
λική ∆ιάµετρ
ς
θάλµι�ι 5
υµ µεγέθυνση 
πτικ
ύ µεγέθυνση 
πτικ
ύ µεγέθυνση 
πτικ
ύ µεγέθυνση 
πτικ
ύ
%ακ�ί × πεδί
υ × πεδί
υ × πεδί
υ × πεδί
υ

0.57
0.8
1
1.25
1.6
2
2.5
3.2
3.6
4
5
6.3
8
9.2

0.57
0.8
1
1.25
1.6
2
2.5
3.2
3.6
4
5
6.3
8
9.2

0.57
0.8
1
1.25
1.6
2
2.5
3.2
3.6
4
5
6.3
8
9.2

0.57
0.8
1
1.25
1.6
2
2.5
3.2
3.6
4
5
6.3
8
9.2

7.1
10

12.5
15.6

20
25
31
40
45
50

62.5
79

100
115

11.4
16
20
25
32
40
50
64
72
80

100
126
160
184

17.8
25

31.3
39.1

50
62.5
78.1
100
113
125
156
197
250
288

28.5
40
50

62.5
80

100
125
160
180
200
250
315
400
460

29.5
21

16.8
13.4
10.5
8.4

6.72
5.25
4.67
4.2

3.36
2.67
2.1

1.83

19.6
14

11.2
8.96

7
5.6

4.48
3.5

3.11
2.8

2.24
1.78
1.4

1.22

13.3
9.5
7.6

6.08
4.75
3.8

3.04
2.38
2.11
1.9

1.52
1.21
0.95
0.83

8.42
6

4.8
3.84

3
2.4

1.92
1.5

1.33
1.2

0.96
0.76
0.6

0.52

3.56
5

6.25
7.81

10
12.5
15.6

20
22.5

25
31.3
39.4

50
57.5

5.7
8

10
12.5

16
20
25
32
36
40
50
63
80
92

8.91
12.5
15.6
19.5

25
31.3
39.1

50
56.3
62.5
78.1
98.4
125
144

14.3
20
25

31.3
40
50

62.5
80
90

100
125
158
200
230

58.9
42

33.6
26.9

21
16.8
13.4
10.5
9.33
8.4

6.72
5.33
4.2

3.65

39.3
28

22.4
17.9

14
11.2
8.96

7
6.22
5.6

4.48
3.56
2.8

2.43

26.7
19

15.2
12.2
9.5
7.6

6.08
4.75
4.22
3.8

3.04
2.41
1.9

1.65

16.8
12
9.6

7.68
6

4.8
3.84

3
2.67
2.4

1.92
1.52
1.2

1.04

5.7
8

10
12.5

16
20
25
32
36
40
50
63
80
92

9.12
12.8

16
20

25.6
32
40

51.2
57.6

64
80

101
128
147

14.3
20
25

31.3
40
50

62.5
80
90

100
125
158
200
230

22.8
32
40
50
64
80

100
128
144
160
200
252
320
368

36.8
26.3

21
16.8
13.1
10.5
8.4

6.56
5.83
5.25
4.2

3.33
2.63
2.28

24.6
17.5

14
11.2
8.75

7
5.6

4.38
3.89
3.5
2.8

2.22
1.75
1.52

16.7
11.9
9.5
7.6

5.94
4.75
3.8

2.97
2.64
2.38
1.9

1.51
1.19
1.03

10.5
7.5

6
4.8

3.75
3

2.4
1.88
1.67
1.5
1.2

0.95
0.75
0.65

14.3
20
25

31.3
40
50

62.5
80
90

100
125
158
200
230

22.8
32
40
50
64
80

100
128
144
160
200
252
320
368

35.6
50

62.5
78.1
100
125
156
200
225
250
313
394
500
575

57
80

100
125
160
200
250
320
360
400
500
630
800
920

14.7
10.5
8.4

6.72
5.25
4.2

3.36
2.63
2.33
2.1

1.68
1.33
1.05
0.91

9.82
7

5.6
4.48
3.5
2.8

2.24
1.75
1.56
1.4

1.12
0.89
0.7

0.61

6.67
4.75
3.8

3.04
2.38
1.9

1.52
1.19
1.06
0.95
0.76
0.6

0.48
0.41

4.21
3

2.4
1.92
1.5
1.2

0.96
0.75
0.67
0.6

0.48
0.38
0.3

0.26

10×/21B

16×/14B

25×/9.5B

40×/6B

Z6 APO: Zoom 0.57 – 3.6, Z16 APO: Zoom 0.57 – 9.2

Αντικειµενικ�ί
%ακ�ί

Επίπεδ�υ πεδί�υ
απ��ρωµατικ�ς 1×

Επίπεδ�υ πεδί�υ
απ��ρωµατικ�ς 0.5×

Επίπεδ�υ πεδί�υ
απ��ρωµατικ�ς 0.8×

Επίπεδ�υ πεδί�υ
απ��ρωµατικ�ς 2×

4.3 dπτικά �αρακτηριστικά



Leica Microsystems – the brand
for outstanding products

Leica Microsystems – an international company 
with a strong network of customer services
Australia: Gladesville, NSW Tel. +1 800 625 286 Fax +61 2 9817 8358
Austria: Vienna Tel. +43 1 486 80 50 0 Fax +43 1 486 80 50 30
Canada: Richmond Hill/Ontario Tel. +1 905 762 20 00 Fax +1 905 762 89 37
China: Hong Kong Tel. +8522 564 6699 Fax +8522 564 4163
Denmark: Herlev Tel. +45 44 5401 01 Fax +45 44 5401 11
France: Rueil-Malmaison 

Cédex Tel. +33 1 4732 8585 Fax +33 1 4732 8586
Germany: Bensheim Tel. +49 6251 1360 Fax +49 6251 136 155
Italy: Milan Tel. +39 02 57 486 1 Fax +39 02 5740 3273
Japan: Tokyo Tel. +81 3 543 596 09 Fax +81 3 543 596 15
Korea: Seoul Tel. +82 2 514 6543 Fax +82 2 514 6548
Netherlands: Rijswijk Tel. +31 70 41 32 130 Fax +31 70 41 32 109
Portugal: Lisbon Tel. +35 1 213 889 112 Fax +35 1 213 854 668
Singapore: Tel. +65 6 77 97 823 Fax +65 6 77 30 628
Spain: Barcelona Tel. +34 93 494 9530 Fax +34 93 494 9532
Sweden: Sollentuna Tel. +46 8 625 45 45 Fax +46 8 625 45 10
Switzerland: Glattbrugg Tel. +41 1 809 34 34 Fax +41 1 809  34 44
United Kingdom: Milton Keynes Tel. +44 1908 666 663 Fax +44 1908 609 992
USA: Bannockburn/Illinois Tel. +1 800 248 0123 Fax +1 847 405 0164

and representatives of Leica Microsystems 
in more than 100 countries.

Leica Microsystems’ Mission is to be the world’s first-choice provider of innovative 
solutions to our customers’ needs for vision, measurement, lithography and analysis 
of microstructures.

Leica, the leading brand for microscopes and scientific instruments, has developed 
from five brand names, all with a long tradition: Wild, Leitz, Reichert, Jung and 
Cambridge Instruments. Leica symbolizes not only tradition, but also innovation. 

The companies of the Leica Microsystems
Group operate internationally in five business
segments, where we rank with the market 
leaders.

Microscopy
Our expertise in microscopy is the basis for all
our solutions for visualization, measurement
and analysis of microstructures in life sciences
and industry.

Specimen Preparation
We specialize in supplying complete solutions
for histology and cytopathology.

Imaging Systems
With confocal laser technology and image 
analysis systems, we provide three-dimensional
viewing facilities and offer new solutions for
cytogenetics, pathology and material sciences.

Medical Equipment
Innovative technologies in our surgical micro-
scopes offer new therapeutic approaches in
microsurgery. With automated instruments for
ophthalmology, we enable new diagnostic 
methods to be applied.

Semiconductor Equipment 
Our automated, leading-edge measurement
and inspection systems and our E-beam 
lithography systems make us the first choice
supplier for semiconductor manufacturers all
over the world.

In accordance with the ISO 9001 certificate, Leica Microsystems (Switzerland) Ltd., 
Business Unit Stereomicroscopy has at its disposal a management system that meets the
requirements of the international standard for quality management. Ill
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Leica Microsystems (Switzerland) Ltd.
Business Unit SM
CH-9435 Heerbrugg

Telephone +41 71 726 33 33
Fax +41 71 726 33 99
www.leica-microsystems.com
www.stereomicroscopy.com


